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A surveying instrument includes a distance- 
measuring optical system having an objective 
lens via which a distance from the surveying 
instrument to an object is measured; and an 
optical distance meter which includes a reflection 
member positioned behind the objective lens, a 
light-transmitting optical system for transmitting a 
measuring light toward the object via the 
reflection member and the objective lens, and a 
light-receiving optical system for receiving a 
portion of the measuring light which is reflected 
by the object, subsequently passed through the 
objective lens, and not interrupted by the 
reflection member. The light-receiving optical 
system includes a plurality of light-guiding optical 
systems, so that the measuring light which is 
reflected by the object is selectively incident on 
an end of one of the plurality of light-guiding 
optical systems in accordance with the distance 
from the surveying instrument to the object. 
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Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unter lagan entnommen 

(3) Vermessungsinstrurment mit optischem Entfernungsmesser 

(57) Ein Vermessungsinstrument enthalt efne Entfernungs- 
messoptik mit einer Objektivlinse, uber welche die Entfer- 
nung eines Objektes zu dem Vermessungsinstrument ge- 
messen wird, und einen opt i sen en Entfernungsmesser 
mit einem hinter der Objektivlinse angeordneten Reflexi- 
onselement, einer Sendeoptik zum Aussenden von Mess- 
licht uber das Reflexionselement und die Objektivlinse 
auf das Objekt und einer Empfangsoptik zum Empfangen 
eines Teils des Messlichtes, der an dem Objekt reflektiert 
wird, anschliefcend durch die Objektivlinse tritt und von 
dem Refelxionselement nicht an seiner Lichtausbreitung 
gehindert wird. Die Empfangsoptik enthalt mehrere Licht- 
leitoptiken, derart, dass das an dem Objekt reflektierte 
Messlicht entsprechend der Objektentfernung wahlweise 
auf das Eintrittsende einer der Lichtleitoptiken gefuhrt 
wird. 




1 



1 <F-Scftalttr K 44 



00 

00 
CM 



Q 



Uh 101 28 

l 

Beschreibung 

[0001] Die Erfindung betrifft ein Vermessungsinstrument 
mit optischem Entfernungsmesser und im engeren Sinne ein 
Vermessungsinstrument, das einen opiiscben Entfemungs- 5 
messer und eine Scharfenerfassungsvorrichtung hat, die den 
Scharfstellzustand einer Entfernungsmessoptik, z. B. eines 
Zielfenirohrs erfasst. 

[0002] Zum Messen der Entfernung zwischen zwei Punk- 
ten setzt ein Vermessungstechniker ublicherweise einen als 10 
Verraessungsinstrument gestalteten elektronischen Entfer- 
nungsmesser (EDM) ein. Ein solcher elektronischer Entfer- 
nungsmesser berechnet die Entfernung iiber die Phasendif- 
ferenz zwischen projiziertem, d. h. ausgesendetem Licht 
und reflektiertem Licht sowie uber die Anfangsphase inter- 15 
nen Referenzlichtes oder uber die Zeitdifferenz zwischen 
projiziertem und reflektiertem Licht. 
[0003] Ein typischer elektronischer Entfernungsmesser 
hat hinter der Objektivlinse seines als Entfernungsmessoptik 
dienenden Zielfemrohrs einen auf der optischen Achse des 20 
Zielfernrohrs angeordneten Lichtsendespiegel (Lichttrans- 
missionsspiegel), um das Messlicht durch die Mitte der Ein- 
trittspupille der Objektivlinse des Zielfernrohrs auf das Ziel- 
objekt zu projizieren. Das Licht, das an dem Zielobjekt re- 
flektiert wird und durch die Objektivlinse des Zielfernrohrs 25 
tritt, durchlauft den den Sendespiegel umgebenden Raum 
und wird iiber ein wellenlangenselektives Filter und einen 
Lichtempfangsspiegel eingefangen. 
[0004] In einem solchen elektronischen Entfernungsmes- 
ser wird das Licht, das an dem Zielobjekt reflektiert wird 30 
und durch die Objektivlinse des Zielfernrohrs geht, in um so 
starkerem AusmaB von dem Sendespiegel gesperrt, d. h. in 
seiner Lichtausbreitung unterbrochen, je naher sich das Ziel- 
objekt an dem Entfernungsmesser befindet. Wird das Licht, 
das an dem Zielobjekt reflektiert wird und durch die Objek- 35 
tivlinse des Zielfemrohrs geht, in starkem AusmaB von dem 
Sendespiegel gesperrt, so nimmt die auf den vorstehend ge- 
nannten Empfangsspiegel auftreffende Lichtmenge entspre- 
chend ab, was die Genauigkeit der Entfemungsmessung be- 
eintrachtigt oder die Entfemungsmessung sogar unmoglich 40 
macht. Zur Vermeidung dieser Probleme sind verschiedene 
Vorschlage gemacht worden. 

[0005] Angesichts der vorstehend genannten Probleme 
hegt der Erfindung die Aufgabe zugrunde, ein Vermes- 
sungsinstrument mit einem optischen Entfernungsmesser 45 
anzugeben, bei dem diese Probleme in einfacher Weise 
iiberwunden werden, ohne die Leistungseigenschaften der 
von dem optischen Entfernungsmesser vorgenommenen 
Entfemungsmessung zu beeintrachtigen, wenn die Entfer- 
nung zu einem Zielobjekt bei maximal rnessbarer Entfer- 50 
nung gemessen wird. 

[0006] Eine weitere Aufgabe der Erfindung besteht darin, 
ein Vermessungsinstrument mit einem optischen Entfer- 
nungsmesser und einer Scharfenerfassungsvorrichtung zum 
Erfassen des Scharfstellzustandes einer Entfemungsmess- 55 
optik anzugeben, bei dem die vorstehend genannten Pro- 
bleme in einfacher Weise iiberwunden werden, ohne die 
Leistungseigenschaften der von dem optischen Entfer- 
nungsmesser vorgenommenen Entfemungsmessung zu be- 
eintrachtigen, wenn die Entfernung zu einem Zielobjekt bei 60 
maximal rnessbarer Entfernung gemessen wird. 
[0007] Die Erfindung lost diese Aufgaben durch die Ge- 
genstande der unabhangigen Anspruche, Vorteilhafte Wei- 
terbildungen sind jeweils in den Unteranspriichen angege- 
ben. 65 
[0008] Die Erfindung wird im Folgenden an Hand der Fi- 
guren naher erlautert. Darin zeigen: 
[0009] Fig. 1 eine schematische Darstellung eines mit ei- 
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nem Autofokussystem ausgestaueten elektronischen Entfer- 
nungsmessers als erstes Ausfiihrungsbeispiel, 
[0010] Fig. 2 eine Scharfenerfassungsvorrichtung und ein 
Porroprismenaufrichtsystem in Blickrichtung des in Fig. 1 
gezeigten Pfeils II, 

[0011] Fig. 3 eine Darstellung einer Objektivlinse eines 
Zielfemrohrs in Blickrichtung der in Fig. 1 gezeigten Pfeile 
III zur Erlauterung, wie zwei auf der Objektivlinse festge- 
legte Pupillenbereiche, ein Sende/Empfangsspiegel und ein 
Lichtleiterbiindel zueinander angeordnet sind, 
[0012] Fig. 4A eine vergroBerte Seitenansicht eines Ein- 
trittsendes des Lichdeiterbundels und einer dessen Eintritts- 
ende haltenden Lichtleiterhaltemng, wobei der Zustand des 
auf die Eintrittsflache des Lichtleiterbundels treflfenden 
Messlichtes gezeigt ist, wenn der elektronische Entfer- 
nungsmesser die Entfernung zu einem Zielobjekt in groBer 
Entfernung misst, 

[0013] Fig. 4B eine Darstellung ahnlich der nach Fig. 4A, 
die den Zustand des auf die Eintrittsflache des Lichdeiter- 
bundels treffenden Messlichtes zeigt, wenn der elektroni- 
sche Entfernungsmesser die Entfernung zu einem Zielobjekt 
in einer ersten kurzen Entfernung misst, 
[0014] Fig. 4C eine Darstellung ahnlich der nach Fig. 4A, 
die einen anderen Zustand des auf die Eintrittsflache des 
Lichtleiterbundels treffenden Messlichtes zeigt, wenn der 
elektronische Entfernungsmesser die Entfernung zu einem 
Zielobjekt in einer zweiten kurzen Entfernung misst, 
[0015] Fig. 5 eine vergroBerte Seitenansicht eines Aus- 
trittsendes des Lichtleiterbundels und die dieses umgeben- 
den Elemente, 

[0016] Fig. 6 eine Darstellung ahnlich der nach Fig. 1 mit 
einem zweiten Ausfiihrungsbeispiel des mit einem Autofo- 
kussystem ausgestatteten elektronischen Entfemungsmes- 
sers, 

[0017] Fig. 7 eine Draufsicht eines in dem elektronischen 
Entfernungsmesser nach Fig. 6 vorgesehenen Fokussierlin- 
sen-Antriebsmechanismus in Blickrichtung des in Fig. 6 ge- 
zeigten Pfeils VI, 

[0018] Fig. 8A eine vergroBerte Seitenansicht eines Ein- 
trittsendes eines Lichtleiterbundels und die dieses umgeben- 
den Elemente in dem in Fig. 7 gezeigten zweiten Ausfuh- 
rungsbeispiel des elektronischen Entfemungsmessers, wo- 
bei der Zustand des auf die Eintrittsflache des Lichtieiter- 
biindels treffenden Messlichtes gezeigt ist, wenn der elek- 
tronische Entfernungsmesser die Entfernung zu einem Ziel- 
objekt in groBer Entfernung misst, 
[0019] Fig. 8B eine Darstellung ahnlich der nach Fig. 8A, 
die den Zustand des auf die Eintrittsflache des Lichtleiter- 
bundels treffenden Messlichtes zeigt, wenn der elektroni- 
sche Entfernungsmesser die Entfernung zu einem Zielobjekt 
in einer ersten kurzen Entfernung misst, 
[0020] Fig. 8C eine Darstellung ahnlich der nach Fig. 8A, 
die den Zustand des auf die Eintrittsflache des Lichdeiter- 
bundels treffenden Messlichtes zeigt, wenn der elektroni- 
sche Entfernungsmesser die Entfernung zu einem Zielobjekt 
in einer zweiten kurzen Entfernung misst, 
[0021] Fig. 9A eine Unteransicht der das Eintrittsende des 
Lichtleiterbundels nach Fig. 8A umgebenden Elemente, 
[0022] Fig. 9B eine Unteransicht der das Eintrittsende des 
Lichtleiterbundels nach Fig. 8B umgebenden Elemente, 
[0023] Fig. 9C eine Unteransicht der das Eintrittsende des 
LichUeiterbiindels nach Fig. 8C umgebenden Elemente, 
[0024] Fig. 10 ein Blockdiagramm eines Steuersystems 
zum Steuem des in Fig. 6 gezeigten zweiten Ausfuhrungs- 
beispiels des elektronischen Entfemungsmessers, 
[0025] Fig. 11 ein Russdiagramm eines Prozesses zum 
Ansteuem einer Lichtabschirmmaske, der von der in Fig. 10 
gezeigten Steuerschaltung ausgefuhrt wird, 
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[0026] Fig. 12A eine vergroBerte Seitenansicht eines Aus- 
trittsendes des Lichlleiterbilndels und der dieses umgeben- 
den Elemente in dem in Fig. 6 gezeigten zweiten Ausfuh- 
rungsbeispiel des elektronischen Hntfemungsmessers, 
[0027] Fig. 12B einen Querschnitl des Lichtleiterbiindels 5 
entlang der in Fig. 12A gezeiglen Linie VII- VH zur Erlaute- 
rung, wie die Austrittsflache des Lichtleiterbiindels und das 
Lichtempfangselement zueinander angeordnet sind, 
[0028] Fig. 13 eine vergroBerte Seitenansicht einer ande- 
ren Ausfuhrungsform eines grundlegenden Teils des in dem 10 
zweiten Ausfuhrungsbeispiel nach Fig. 6 gezeigten opti- 
schen Entfernungsmessers fur den Fall, dass fur jeden Licht- 
leiter des Lichtleiterbundels ein Lichtempfangselement vor- 
gesehen ist, 

[0029] Fig. 14 ein Flussdiagramm einer anderen Ausfiih- 15 
rungsform des Prozesses zura Ansteuem der Lichtabschirm- 
maske, der von der in Fig. 10 gezeigten Steuerschaltung 
durchgefuhrt wird, 

[0030] Fig. 15A und 15B ein Fiussdiagramm einer weite- 
ren Ausfuhrungsform des von der Steuerschaltung nach Fig. 20 
10 durchgefuhrten Prozesses zum Ansteuern der Lichtab- 
schirmmaske, 

[0031] Fig. 16A eine vergroBerte Seitenansicht eines Ein- 
trittsendes eines Lichtleiters und der dieses umgebenden 
Elemente in einem dritten Ausfiihrungsbeispiel des elektro- 25 
nischen Entfernungsmessers, wobei der Zustand des auf die 
Eintrittsflache des Lichtleiters treffenden Messlichtes ge- 
zeigt ist, wenn der elektronische Entfernungsmesser die 
Entfemung zu einem Zielobjekt in groBer Entfernung misst, 
[0032] Fig. 16B eine Darstellung ahnlich der nach Fig. 30 
16A, die einen anderen Zustand des auf die Eintrittsfiache 
des Lichtleiters treffenden Messlichtes zeigt, wenn der elek- 
tronische Entfernungsmesser die Entfernung zu einem Ziel- 
objekt in einer ersten kurzen Entfernung misst, 
[0033] Fig. 16C eine Darstellung ahnlich der nach Fig. 35 
16A, die einen weiteren Zustand des auf die Eintrittsflache 
des Lichtleiters treffenden Messlichtes zeigt, wenn der elek- 
tronische Entfernungsmesser die Entfemung zu einem Ziel- 
objekt in einer zweiten kurzen Entfernung misst, 
[0034] Fig. 17 eine Unteransicht eines ersten Ausfuh- 40 
rungsbeispiels einer in den Fig. 16 A, 16B und 16C gezeig- . 
ten Lichtabschirmmaske, 

[0035] Fig, 18 eine Unteransicht eines zweiten Ausfuh- 
rungsbeispiels der in den Fig. 16 A, 16B und 16C gezeigten 
Lichtabschirmmaske, 45 
[0036] Fig. 19A eine Unteransicht eines dritten Ausfuh- 
rungsbeispiels der in den Fig. 16 A, 16B und 16C gezeigten 
Lichtabschirmmaske, 

[0037] Fig. 19B eine Unteransicht eines vierten Ausfuh- 
rungsbeispiels der in den Fig. 16 A, 16B und 16C gezeigten 50 
Lichtabschirmmaske, 

[0038] Fig. 20A eine Unteransicht eines funften Ausfuh- 
rungsbeispiels der in den Fig. 16A, 16B und 16C gezeigten 
Lichtabschirmmaske, 

[0039] Fig. 20B eine Unteransicht eines sechsten Ausfuh- 55 
rungsbeispiels der in den Fig. 16 A, 16B und 16C gezeigten 
Lichtabschirmmaske, 

[0040] Fig. 21 eine Darstellung ahnlich der nach Fig. 1 
mit einem anderen Ausfuhrungsbeispiel einer Lichtleitoptik, 
und 60 
[0041] Fig. 22 eine Darstellung ahnlich der nach Fig. 1 
mit einem weiteren Ausfuhrungsbeispiel der Lichtleitoptik. 
[0042] Die Fig. 1 bis 5 zeigen ein erstes Ausfuhrungsbei- 
spiel eines erfindungsgemaBen elektronischen Entfernungs- 
messers (EDM), der mit einem Autofokussystem ausgestat- 65 
tet ist. Der elektronische Entfernungsmesser ist als Vermes- 
sungsinstrument mit Zielfemrohr (Zieloptik/Entfemungs- 
messoptik) 10 und optischem Entfernungsmesser 20 ausge- 
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staltet, Wie in Fig. 1 gezeigt, enthalt das Zielfemrohr 10 
eine Objektivlinse 11, eine Fokussier- oder Scharfstelllinse 
18, ein Porroprismenaufrichtsystem 12, eine Bildebenen- 
platte (Fadenkreuzplatte) 13 und ein Okular 14, die in dieser 
Reihenfolge vom Objekt her, d. h. in Fig. 1 von links nach 
rechts angeordnet sind. Auf der Bildebenenplatte 13 ist ein 
Fadenkreuz 15 vorgesehen. Die Fokussierlinse 18 ist langs 
einer optischen Achse des Zielfernrohrs 10 gefiihrt. Das 
durch die Objektivlinse 11 erzeugte Bild des Zielobjektes 16 
kann prazise auf die der Objektivlinse 11 zugewandte Vor- 
derflache der Bildebenenplatte 13 fokussiert werden, indem 
die axiale Position der Fokussierlinse 18 entsprechend der 
Entfernung des Zielobjektes 16 bezuglich des Zielfernrohrs 
10 eingestellt wird. Der Benutzer des Vermessungsinstru- 
mentes, in der Regel ein Vermessungstechniker, visiert uber 
das Okular 14 ein vergroBertes Bild des Zielobjektes 16 an, 
das auf die Bildebenenplatte 13 fokussiert ist. 
[0043] Der elektronische Entfernungsmesser hat hinter 
der Objektivlinse 11 des Zielfernrohrs 10 einen Lichtsende/- 
empfangsspiegel (Reflexionselement) 21 und einen wellen- 
langenselektiven Spiegel (wellenlangenselektives Filter) 22, 
die in dieser Reihenfolge vom Objekt her angeordnet sind. 
Der Sende-/Empfangsspiegel 21 besteht aus einem Parallel- 
plattenspiegel mit einer Vorderflache und einer hierzu paral- 
lelen Ruckflache, die auf der optischen Achse der Objektiv- 
linse 11 angeordnet sind. Die der Objektivlinse 11 zuge- 
wandte Vorderflache des Parallelplattenspiegels ist als 
Lichtsendespiegel 21a ausgebildet, wahrend die dem wel- 
lenlangenselektiven Spiegel 22 zugewandte Ruckflache des 
Parallelplattenspiegels als Lichtempfangsspiegel 21b ausge- 
bildet ist. Der Empfangsspiegel 21b und der wellenlangen- 
selektive Spiegel 22 bilden grundlegende optische Elemente 
einer Lichtempfangsoptik des optischen Entfernungsmes- 
sers 20. 

[0044] Der optische Entfernungsmesser 20 hat ein Licht- 
aussendeelement23, z. B. eine Laserdiode, das Licht (Mess- 
licht) einer bestimmten Wellenlange aussendet. Das von 
dem Lichtaussendeelement 23 abgegebene Messlicht trifft 
uber eine Kollimatorlinse 24 und einen festen Spiegel 25 auf 
den Sendespiegel 21a. Das Messlicht, das von dem Licht- 
aussendeelement 23 auf den Sendespiegel 21a ausgegeben 
wird, wird an letzterem reflektiert und lauft langs der opti- 
schen Achse der Objektivlinse 11 auf das Zielobjekt zu. Die 
Kollimatorlinse 24, der feste Spiegel 25 und der Sendespie- 
gel 21a (Sende-/Empfangsspiegel 21) bilden grundlegende 
optische Elemente einer Sendeoptik des optischen Entfer- 
nungsmessers 20. 

[0045] Der Teil des an dem Zielobjekt 16 reflektierten und 
anschlieBend durch die Objektivlinse 11 tretenden Messlich- 
tes, der von dem Sende~/Empfangsspiegel 21 nicht gesperrt 
wird, wird schlieBlich an dem wellenlangenselektiven Spie- 
gel 22 zuriick auf den Empfangsspiegel 21b reflektiert. An- 
schlieBend reflektiert der Empfangsspiegel 21b das auf ihn 
treffende Messlicht so, dass dieses in eine Eintrittsflache 26a 
eines lichtempfangenden Lichtleiterbiindels (Lichtleitfaser- 
bundel) 26 eintritt. Eine Lichtleiterhalterung 27 halt das Ein- 
trittsende des Lichtleiterbiindels 26, an dem die Eintrittsfla- 
che 26a ausgebildet ist. Die Lichtleiterhalterung 27 ist uber 
eine nicht dargestellte Befestigungsvorrichtung, die sich in 
einem Raum hinter der Objektivlinse 11 befindet, zusam- 
men mit dem SendeTEmpfangsspiegei 21 unbeweglich ge- 
h alt en. 

[0046] Der elektronische Entfernungsmesser hat in einem 
Entfernungsmessstrahlengang zwischen dem Lichtaussen- 
deelement 23 und dem festen Spiegel 25 einen Umschalts- 
piegel 28 und ein ND-Filter 29. Das von dem Lichtaussen- 
deelement 23 abgegebene Licht trifft als Messlicht auf den 
festen Spiegel 25, wenn der Umschaltspiegel 28 aus dem 
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Entfemungsraessstrahlengang zwischen der Kollimatorlinse 
24 und dem festen Spiegel 25 herausgezogen ist Dagegen 
wird das von dem Lichtaussendeelement 23 abgegebene 
Licht als internes Referenzlicht an dem Umschaltspiegel 28 
direkt auf die Eintrittsflache 26a des Lichdeiterbundels 26 
reflektiert, wenn sich der Umschaltspiegel 28 in dem Entfer- 
nungsmessstrahlengang zwischen der Kollimatorlinse 24 
und dem festen Spiegel 25 befindet. Das ND-Filter 29 dient 
dazu, die Menge des auf das Zielobjekl 16 treffenden Mess- 
lichtes einzustellen. 

[0047] Der elektronische Entfernungsmesser hat zwischen 
einer Austrittsflache 26b des Lichtleiterbiindels 26 und ei- 
nem Lichtempfangselement 31 eine Kondensorlinse 32, ein 
ND-Filter 33 und ein Bandpassfilter 34, die in dieser Rei- 
henfolge von der Austrittsflache 26b zum Lichtempfangs- 
element 31 hin angeordnet sind. Das Lichtempfangselement 
31 ist an eine arithmetische Steuerschaltung (Steuerung) 40 
angeschlossen. Die arithmetische Steuerschaltung 40 ist mit 
einem Stellglied 41, das den Umschaltspiegel 28 antreibt, 
und einer Anzeigevorrichtung 42, z. B. einem LCD-Feld 
verbunden, das die berechnete Entfemung anzeigt. 
[0048] Bekanntlich arbeitet ein optischer Entfernungs- 
messer wie der Entfernungsmesser 20 in zwei verschiede- 
nen Betriebszustanden: In einem ersten Zustand wird das 
von dem Lichtaussendeelement 23 abgegebene Messlicht 
dem festen Spiegel 25 zugefuhrt. In dem anderen Zustand 
wird das gleiche Licht als internes Referenzlicht direkt der 
Eintrittsflache 26a des Lichtieiterbiindels 26 zugefuhrt. Die 
beiden vorstehend genannten Zustande sind durch den 
Schaltzustand des Umschaltspiegels 28 festgelegt, den die 
Steuerschaltung 40 iiber das Stellglied 41 ansteuert. Wie 
oben beschrieben, wird das dem festen Spiegel 25 zuge- 
fiihrte Messlicht iiber den Sendespiegel 21a und die Objek- 
tivlinse 11 auf das Zielobjekt 16 projiziert. Das an dem Ziel- 
objekt 16 reflektierte Messlicht trifft iiber die Objektivlinse 
11, den wellenlangenselektiven Spiegel 22 und den Licht- 
empfangsspiegel 21b auf die Eintrittsflache 26a. Anschlie- 
Bend empfangt das Lichtempfangselement 31 sowohl das 
Messlicht, das an dem Zielobjekt 16 reflektiert wird und 
schlieBlich auf die Eintrittsflache 26a trifft, als auch das in- 
terne Referenzlicht, das der Eintrittsflache 26a direkt iiber 
den Umschaltspiegel 28 zugefuhrt wird. Die arithmetische 
Steuerschaltung 40 erfasst die Phasendifferenz zwischen 
dem projizierten Licht und dem reflektierten Licht sowie die 
Anfangsphase des internen Referenzlichtes oder aber die 
Zeitdifferenz zwischen dem projizierten und dem reflektier- 
ten Licht, um daraus die Entfernung des Zielobjektes 16 von 
dem elektronischen Entfernungsmesser zu berechnen. Die 
berechnete Entfernung wird an der Anzeigevorrichtung 42 
angezeigt. Das Berechnen der Entfernung aus der Phasen- 
differenz zwischen projiziertem Licht und reflektierlem 
Licht sowie der Anfangsphase des internen Referenzlichtes 
oder aus der Zeitdifferenz zwischen projiziertem und reflek- 
tiertem Licht sind aus dem Stand der Technik bekannt. 
[0049] Das Porroprismenaufrichtsystem 12 ist mit einer 
Strahlteilerflache versehen, die das auftreffende Lichtbiindel 
in zwei Lichtbiindel aufspaltet, von denen eines auf eine 
nach dem Prinzip der Phasendifferenzerfassung arbeitende 
AF-Sensoreinheit (Scharfenerfassungsvorrichtung) 50, die 
im Folgenden kurz als AF-Einheit bezeichnet wird, zulauft, 
wahrend das andere auf das Okular 14 zulauft. Zwischen 
dem Porroprismenaufrichtsystem 12 und der AF-Einheit 50 
ist eine Referenzbildebene 51 an einer S telle ausgebildet, 
die optisch aquivalent zu der Position ist, in der sich das Fa- 
denkreuz 15 der Bildebenenplatte 13 befindet. Die AF-Ein- 
heit 50 erfasst den Scharfstellzustand, d. h. den Defokusbe- 
trag und die Richtung der Fokusverschiebung, in der Refe- 
renzbildebene 51. Big. 2 zeigt die AF-Einheit 50 und. das 



Porroprismenaufrichtsystem 12 in einer schematischen Dar- 
stellung. Die AF-Einheit 50 enthalt eine Kondensorlinse 52, 
ein Paar Separatorlinsen 53, ein Paar Separatormasken 55, 
das sich in enger raumlicher Nahe zu dem Paar Separatorlin- 
5 sen 53 befindet, sowie ein Paar Liniensensoren, z. B. Mehr- 
segment-CCD-Sensoren 54, die hinter den jeweiligen Sepa- 
ratorlinsen 53 angeordnet sind. Die beiden Separatorlinsen 
53 sind um die Basislange voneinander beabstandet. Das in 
der Referenzbildebene 51 erzeugte Bild des Zielobjektes 11 

10 wind von den beiden Separatorlinsen 53 in zwei Bilder ge- 
teilt, von denen eines auf dem einen Liniensensor und das 
andere auf dem anderen Liniensensor 54 erzeugt wird. Die 
beiden Liniensensoren 54 enthalten jeweils eine Anordnung 
fotoelektrischer Wandierelemente. Jedes dieser Wandlerele- 

15 mente wandelt das empfangene Licht eines Bildes in elektri- 
sche Ladungen, die integriert, d. h. gesammelt werden, und 
gibt die integrierte eiektrische Ladung als AF-Sensordaten 
an die arithmetische Steuerschaltung 40 aus. Die Steuer- 
schaltung 40 berechnet in einer vorbestimmten Defokusope- 

20 ration einen Defokusbetrag entsprechend einem Paar AF- 
Sensordaten, die von dem Paar Liniensensoren 54 ausgege- 
ben werden. In einer Autofokusoperation steuert die Steuer- 
schaltung 40 die Fokussierlinse 18 iiber einen in Fig. 1 ge- 
zeigten Linsenantrieb 43 entsprechend dem berechneten De- 

25 fokusbetrag so an, dass auf das Zielobjekt 16 scharfgestellt 
wird. Die Defokusoperation ist aus dem Stand der Technik 
bekannt. Ein AF-Schalter 44 zum Starten der AF- Operation 
und ein Entfemungsmessschalter 45 zum Starten der Entfer- 
nungsmessung sind an die Steuerschaltung 40 angeschlos- 

30 sen. 

[0050] Die AF-Einheit 50 erfasst den Scharfstellzustand 
aus den beiden Bildern, die die beiden Lichtbiindel, die 
durch zwei verschiedene auf der Objektivlinse 11 festge- 
legte Pupillenbereiche 11 A und 11B treten, auf den beiden 

35 Liniensensoren 54 erzeugen. Die Form jedes der beiden Pu- 
pillenbereiche 11 A und 11B ist durch die Form der Apertur, 
d. h. der Offnung festgelegt, die auf einer jeweils zugehori- 
gen von zwei Separatormasken 55 ausgebildet ist. Die Sepa- 
ratormasken 55 sind zwischen der Kondensorlinse 52 und 

40 den beiden Separatorlinsen 53 angeordnet und befinden sich 
nahe den jeweiligen Separatorlinsen 53. Die in Fig, 1 bis 3 
gezeigten schraffierten Bereiche geben Bereiche an, die den 
Pupillenbereichen entsprechen, die durch die Offnungen der 
beiden Separatormasken 55 festgelegt sind. 

45 [0051] Fig. 3 zeigt, wie die beiden Pupillenbereiche 11 A 
und 11B zueinander sowie der Sende-/Empfangsspiegel 21 
und der Lichtleiterbundel 26 (Lichtleiterhalterung 27) des 
optischen Entfemungsmessers 20 zueinander angeordnet 
sind. Die Positionen, die Formen und die Ausrichtungen der 

50 beiden Pupillenbereiche 11 A und 11B sind durch die Kon- 
densorlinse 52, die beiden Separatorlinsen 53, die beiden 
Separatormasken 55 und die Anordnung der fotoelektri- 
schen Wandierelemente auf jedem Liniensensor 54 so fest- 
gelegt, dass die Autofokus-Leistungsanforderungen erfullt 

55 sind. Die Positionen der beiden Pupillenbereiche 11A und 
UB relativ zur Mitte der Objektivlinse 11 konnen jedoch 
vergleichsweise frei festgelegt werden. Ferner sind die Posi- 
donen der beiden Pupillenbereiche 11A und 11B so festge- 
legt, dass sie nicht in Konflikt mit dem Strahlengang des an 

60 dem Sendespiegel 21a reflektierten Messlichtes geraten. Der 
Sende/Empfangsspiegel 21 ist mit anderen Worten so ange- 
ordnet, dass er die beiden Pupillenbereiche 11A und 11B 
nicht slorL In dem erlauterten Ausfuhrungsbeispiel des elek- 
tronischen Entfemungsmessers wird das Zielfernrohr 10 als 

65 Entfernungsmessoptik des elektronischen Entfemungsmes- 
sers eingesetzt Es kann jedoch auch eine andere Optik, die 
unabhangig von dem Zielfernrohr 10 ist, als Entfernungs- 
messoptik des elektronischen Entfemungsmessers verwen- 
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det werden. 

[0052] In dem vorliegenden Ausfiihrungsbeispiel des 
elektronischen Entferaungsmessers mit oben erlautertem 
Aufbau besteht das Lichtleiterbiindel 26 des optischen Ent- 
femungsmessers 20 aus drei lichtempfangenden Lichdei- 
tern, namlich einera ersten Lichtleiter 26m als erster Licht- 
leitoptik, einem zweiten Lichtleiter 26n als zweiter Licht- 
leitoptik und einem dritten Lichtleiter 26f als dritter Licht- 
leitoptik. Der erste, der zweite und der dritte Lichtleiter 
26m, 26n, 26f sind an der Lichtleiterhalterung 27 so gehal- 
ten, dass die Mittelachsen ihrer Eintrittsflachen, wie in den 
Fig. 4A, 4B und 4C gezeigt, in einer geraden Linie (in den 
Fig. 4A, 4B und 4C eine horizon tale gerade Linie) angeord- 
net sind. Auf diese Weise ist sichergestellt, dass unabhangig 
davon, ob sich das Zielobjekt in geringer oder groBer Entfer- 
nung befindet, eine ausreichende Menge des an dem Zielob- 
jekt 16 reflektierten Messlichtes auf die Eintrittsflache 26a 
des Lichtleiterbiindels 26 trifft. Beispielsweise wird das an 
dem Zielobjekt 16 reflektierte Messlicht von dem ersten 
Lichtleiter 26m empfangen, wenn sich das Zielobjekt 16 in 
einer Entfemung von etwa 2,5 m (erste kurze Entfemung) 
befindet, wahrend es von dem zweiten Lichtleiter 26n emp- 
fangen wird, wenn sich das Zielobjekt 16 in einer Entfer- 
nung von etwa 1 m (zweite kurze Entfemung) befindet, oder 
von dem dritten Lichtleiter 26f, wenn sich das Zielobjekt in 
einer groBen Entfemung befindet, die groBer als die erste 
kurze Entfemung ist. Unter den drei Lichtleitem 26m, 26n 
und 26f wird namlich ein Lichtleiter, auf dessen Eintrittsfla- 
che das an dem Zielobjekt 16 reflektierte Messlicht geleitet 
wird, in Abhangigkeit der berechneten Entfemung ausge- 
wahlt, da der Auftreffpunkt des Messlichtes, das an dem 
Zielobjekt 16 reflektiert wird, anschlieBend durch die Ob- 
jektivlinse 11 geht und von dem Sende-ZEmpfangsspiegel 21 
nicht gesperrt wird, auf der Eintrittsflache 26a entsprechend 
der Anderung der Entfemung des Zielobjektes 16 von dem 
elektronischen Entfernungsmesser variiert, wie die Fig. 4A, 
4B und 4C zeigen. Wie die Fig. 4A, 4B und AC weiterhin 
zeigen, verlauft der Eintrittsendabschnitt des dritten Licht- 
leiters 26f, der an der Lichtleiterhalterung 27 gehalten ist, 
derart, dass dessen Achse mit einer Achse O des auf die Ein- 
trittsflache 26a des Lichtleiterbiindels 26 treffenden Mess- 
lichtes zusammenfallt. Im Gegensatz zu dem Eintrittsendab- 
schnitt des dritten Lichtleiters 26f verlauft der Eintrittsend- 
abschnitt des ersten Lichdeiters 26m, der ebenso an der 
Lichdeiterhalterung 27 gehalten ist, derart, dass dessen 
Achse um einen vorbestirnmten Abstand (erster Abstand) 
parallel zur Achse 0 des auf die Eintrittsflache 26a treffen- 
den Messlichtes parallel versetzt ist. Der Eintrittsendab- 
schnitt des zweiten Lichtleiters 26n, der ebenfalls an der 
Lichdeiterhalterung 27 gehalten ist, verlauft derart, dass 
dessen Achse um einen anderen vorbestirnmten Abstand 
(zweiter Abstand), der groBer als der vorstehend genannte 
erste Abstand ist, zur Achse 0 des auf der Eintrittsflache 26a 
treffenden Messlichtes parallel versetzt ist. 
[0053] Fig. 4A zeigt, schraffiert angedeutet, das Mess- 
licht, das auf die Eintrittsflache 26a des Lichdeiterbundels 
26 trifft, wenn der elektronische Entfernungsmesser die Ent- 
femung des Zielobjektes 16 in groBer Entfemung misst. Fig. 
4B zeigt, schraffiert angedeutet, das Messlicht, das auf die 
Eintrittsflache 26a des Lichdeiterbundels 26 trifft, wenn der 
elektronische Entfernungsmesser die Entfemung des in der 
ersten kurzen Entfemung angeordneten Zielobjektes 16 
misst. SchlieBlich zeigt Fig. 4C, schraffiert angedeutet, das 
Messlicht, das auf die Eintrittsflache 26a des Lichtleiterbiin- 
dels 26 trifft, wenn der elektronische Entfernungsmesser die 
Entfemung des in der zweiten kurzen Entfemung angeord- 
neten Zielobjektes 16 misst, Misst der elektronische Entfer- 
nungsmesser die Entfemung des in groBer Entfemung ange- 
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ordneten Zielobjektes 16, so trifft iiberhaupt kein Messlicht 
auf den ersten Lichtleiter 26m und den zweiten Lichtleiter 
26n, wie Fig. 4A zeigt Jedoch trifft die Entfemungsmes- 
sung nachteilig beeinflussendes Licht wie direktes oder re- 

5 flekdertes Sonnenlicht auf den ersten und den zweiten 
Lichdeiter 26m, 26n. Insbesondere wenn der elektronische 
Entfernungsmesser die Entfemung des in groBer Entfemung 
angeordneten Zielobjektes 16 misst, wird diese nachteilige 
Beeinflussung der Entfemungsmessung betrachdich, da das 

10 auf die Eintrittsflache 26a des Lichdeiterbundels 26 tref- 
fende Licht in diesem Fall schwach ist. Der Durchmesser 
des ersten und des zweiten Lichdeiters 26m, 26n ist deshalb 
kleiner bemessen als der des dritten Lichdeiters 26f. Der er- 
ste und der zweite Lichdeiter 26m, 26n haben gleichen 

15 Durchmesser. Misst der elektronische Entfernungsmesser 
die Entfemung des in geringer Entfemung angeordneten 
Zielobjektes 16, so verursachen die kleinen Durchmesser 
des ersten und des zweiten Lichdeiters 26m, 26n keine Pro- 
bleme, da in diesem Fall eine ausreichende Menge an Mess- 

20 licht auf die Eintrittsflache 26a des Lichdeiterbundels 26 
trifft. 

[0054] Wie in Fig. 5 gezeigt, sind die Auslrittsendab- 
schnitte der drei Lichdeiter 26m, 26n und 26f eng zu einem 
Biindel zusammengefaBt, und zwar derart, dass sie linear 
25 zueinander verlaufen. Das Lichtbiindel, das durch jeden der 
drei Lichdeiter 26m, 26n und 26f tritt, fallt iiber die Konden- 
sorlinse 32, das ND-Filter 33 und das Bandpassfilter 34 auf 
das Lichtempfangselement 31. 

[0055] Der mit einem Autofokussystem ausgestattete 

30 elektronische Entfernungsmesser mit oben erlautertem Auf- 
bau fuhrt eine Entfemungsmessung in nachfolgend be- 
schriebener Weise durch. Im ersten Schritt visiert der Benut- 
zer das Zielobjekt 16 mit dem Zielfernrohr 10 so an, dass 
dessen optische Achse im Wesentlichen auf das Zielobjekt 

35 16 ausgerichtet ist, wahrend er das Zielobjekt 16 durch ei- 
nen nicht dargesteilten Kollimator betrachtet, der an dem 
Zielfernrohr 10 angebracht ist. Im zweiten Schritt driickt der 
Benutzer den AF-Schalter 44, um die Autofokusoperation 
durchzufuhren und so die Fokussierlinse 18 in ihre Scharf- 

40 stellposidon reladv zu dem Zielobjekt 16 zu bringen. Im 
dritten Schritt richtet der Benutzer bei auf das Zielobjekt 16 
scharfgestelltem Zielfernrohr 10 letzteres so aus, dass das 
durch das Okular 14 betrachtete Fadenkreuz 15 prazise auf 
das Zielobjekt 16 zentriert ist. Dabei blickt er in das Okular 

45 14. Durch prazises Zentrieren des Fadenkreuzes 15 auf das 
Zielobjekt 16 kann das von dem Lichtaussendeelement 23 
des optischen Entfemungsmessers 20 abgegebene Messlicht 
so auf das Zielobjekt 16 ausgesendet werden, dass es prazise 
auf das Zielobjekt 16 trifft. Im vierten Schritt driickt der Be- 

50 nutzer den Entfernungsmessschalter 45, um die oben erlau- 
terte Entfemungsberechnung durchzufuhren. Die berech- 
nete Entfemung wird dann auf der Anzeigevorrichtung 42 
angezeigt. 

[0056] Da in dem oben erlauterten Ausfiihrungsbei spiel 
55 des elektronischen Entfemungsmessers das an dem Zielob- 
jekt 16 reflektierte Messlicht wahlweise in die Eintrittsfla- 
che desjenigen der drei Lichtleiter 26m, 26n und 26f ge- 
langt, der der Entfemung des Zielobjektes 16 von dem elek- 
tronischen Entfernungsmesser zugeordnet ist, fallt unabhan- 
60 gig davon, ob sich das Zielobjekt 16 in geringer oder groBer 
Entfemung befindet, eine ausreichende Menge des an dem 
Zielobjekt 16 reflektierten Messlichtes auf das Lichtemp- 
fangselement 31. Dadurch kann eine Verschlechterung der 
Genauigkeit in der Entfemungsmessung vermieden werden. 
65 Der Sende-ZEmpfangsspiegel 21 und das Lichtieiterbiindel 
26 (Lichdeiterhalterung 27) des optischen Entfemungsmes- 
sers 20 sind so angeordnet, dass sie die beiden Pupillenbe- 
reiche 11A und 11B nicht storen und so die AF-Einheit 50, 
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welche die durch die beiden Pupiiienbereiche 11A und 11B 
tretenden Lichtbundel nutzt, nicht nachteilig beeinflussen. 
Daduich ist eine genaue Autofokusoperation sichergesteilL 
In dem oben erlauterten ersten Ausfuhrungsbeispiel des 
elektronischen Entfemungsmessers ist die Erfindung auf ein 5 
Verraessungsinstrument angewandt, das mit einem Autofo- 
kussystem ausgeslattet ist. Die Erfindung kann jedoch auch 
auf ein Vermessungsinstrument angewendet werden, die 
nicht mit einem Autofokussystem ausgestattet ist. 
[0057] Die Fig. 6 bis 12B zeigen ein zweites Ausfuh- 10 
rungsbeispiel des mit einem Autofokussystem ausgestatte- 
ten elektronischen Entfemungsmessers. Das zweite Ausfiih- 
rungsbeispiel ist im Wesentlichen gleich dem ersten Aus- 
fiihrungsbeispiel, abgesehen davon, dass eine sektorformige 
Lichtabschirmmaske 70, die mehrere Aperturen oder Off- 15 
nungen 70a, 70b und 70c unterschiedlichen Durchmessers 
hat, unmittelbar unterhalb der Eintrittsflache 26a des Licht- 
leiterbiindels 26 zwischen dieser und dem Empfangsspiegel 
21b angeordnet ist, und dass der elektronische Entfemungs- 
messer eine Steuerschaltung 80 hat, die die Funktion, d. h. 20 
die Stellung der Lichtabschirmmaske 70 steuert, wobei die 
Steuerschaltung 80 einen Detektor fur die Maskenstellung 
bildet, Teile oder Elemente des zweiten Ausfuhrungsbei- 
spiels, die identisch mit denen des ersten Ausfuhrungsbei- 
spiels sind, sind mit den entsprechenden Bezugszeichen des 25 
ersten Ausfuhrungsbeispieis versehen und werden im Fol- 
genden nicht nochmals im Detail erlautert. 
[0058] Wie in den Fig. 9A, 9B und 9C gezeigt, ist die 
Lichtabschirmmaske 70 an einer Antriebswelle 73a eines 
Motors (Verstellvorrichtung) 73 befestigt und hat die Form 30 
eines Sektors, dessen Mitte mit der Achse der Antriebswelle 
73a zusammenfallt. Die Lichtabschirmmaske 70 hat drei 
Offnungen, namlich eine kleine Offnung 70a, eine mittlere 
Offnung 70b und eine groBe Offnung 70c in unterschiedli- 
chen Abstanden von der Antriebswelle 73a Der Durchmes- 35 
ser der kleinen Offnung 70a ist kleiner als der der mittleren 
Offnung 70b und deren Durchmesser kleiner als der der gro- 
Ben Offnung 70c. Wie in den Fig. 8A, 8B und 8C gezeigt, 
wird durch Vorwarts- oder Ruckwartsdrehen der Antriebs- 
welle 73a des Motors 73 die kleine Offnung 70a unmittelbar 40 
unter der Eintrittsflache des dritten Lichtleiters 26f, die mitt- 
lere Offnung 70b unmittelbar unter der Eintrittsflache des 
ersten Lichtleiters 26m und die groBe Offnung 70c unmittel- 
bar unter der Eintrittsflache des zweiten Lichdeiters 26n an- 
geordnet. Der Motor 73 enthalt einen nicht dargestellten 45 
Sensor zum Bestimmen, welche der Offnungen 70a, 70b 
und 70c sich gerade unmittelbar unterhalb der Eintrittsflache 
welchen Lichtleiters 26m, 26n oder 26f befindet. In dem 
zweiten Ausfiihrungsbeispiel sind die Durchmesser der drei 
Lichtleiter 26m, 26n und 26f identisch, wahrend in dem er- 50 
sten Ausfiihrungsbeispiel die Durchmesser des ersten und 
des zweiten Lichtleiters 26m, 26n kleiner sind als der 
Durchmesser des dritten Lichtleiters 26f. 
[0059] Wie den Fig. 8A, 8B, 8C, 9A, 9B und 9C zu ent- 
nehmen, ist die Lichtabschirmmaske 70 in einer in den Fig. 55 
8A und 9A gezeigten Femstellung angeordnet, wenn sich 
das Zielobjekt 16 in der oben genannten groBen Entfernung 
befindet, wahrend sie in einer in den Fig. 8B und 9B gezeig- 
ten ersten Nahstellung B angeordnet ist, wenn sich das Ziel- 
objekt 16 in der oben genannten ersten geringen Entfernung 60 
befindet, und sie in einer in den Fig. 8C und 9C gezeigten 
zweiten Darstellung C angeordnet ist, wenn sich das Zielob- 
jekt 16 in der oben genannten zweiten geringen Entfernung 
befindet. Ist die Lichtabschirmmaske 70 in der in den Fig. 
8A und 9A gezeigten Femstellung A angeordnet, so befindet 65 
sich die kleine Offnung 70a unmittelbar unterhalb der Ein- 
trittsflache des dritten Lichtleiters 26f, so dass das an dem 
Empfangsspiegel 21b reflektierte Messlicht nur auf die Ein- 
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trittsflache des dritten Lichtleiters 26f trifft. Ist die lichtab- 
schirmmaske 70 in der in den Fig. 8B und 9B gezeigten er- 
sten Nahstellung B angeordnet, so befindet sich die mittlere 
Offnung 70b unmittelbar unterhalb der Eintrittsflache des 
ersten Lichdeiters 26m, so dass das an dem Empfangsspie- 
gel 21b reflektierte Messlicht nur auf die Eintrittsflache des 
ersten Lichdeiters 26m trifft. Ist die Lichtabschirmmaske 70 
in der in den Fig. 8C und 9C gezeigten zweiten Nahstellung 
C angeordnet, so befindet sich die groBe Offnung 70c unmit- 
telbar unterhalb der Eintrittsflache des zweiten Lichtleiters 
26n, so dass das an dem Empfangsspiegel 21b reflektierte 
Messlicht nur auf die Eintrittsflache des zweiten Lichtleiters 
26n trifft. Indem die Drehstellung der Lichtabschirmmaske 
70 in Abhangigkeit der berechneten Entfernung geandert 
wird, kann so verhindert werden, dass die Entfernungsmes- 
sung nachteilig beeinflussendes Licht wie direktes oder re- 
flektiertes Sonnenlicht auf die drei Lichtleiter 26m, 26n und 
26f trifft. Da in dem zweiten Ausfiihrungsbeispiel des elek- 
tronischen Entfemungsmessers die Entfernungsmessung 
nachteilig beeinflussendes Licht wie direktes oder reflektier- 
tes Sonnenlicht durch die Lichtabschirmmaske 70 entspre- 
chend der berechneten Entfernung gesperrt wird, treten 
selbst dann keine Probleme auf, wenn die Durchmesser der 
drei Lichdeiter 26m, 26n und 26f gleich sind. Dies ist beson- 
ders wirkungsvoll, wenn ein Zielobjekt mit extrem gerin- 
gem Reflexionsvermogen anvisiert wird, da die an diesem 
Objekt reflektierten Lichtstrahlen selbst in einem Bereich 
geringer Entfernung schwach sind. 
[0060] In dem zweiten Ausfiihrungsbeispiel des elektroni- 
schen Entfemungsmessers sind die Austrittsendabschnitte 
der drei Lichdeiter 26m, 26n und 26f dicht derart zu einem 
Biindel gebunden, dass die Mittelachsen der Austrittsfla- 
chen der drei Lichtleiters 26m, 26n und 26f auf einem Kreis 
g urn die Achse Os des Lichtempfangselementes 31 herum 
angeordnet sind, wie Fig. 12B zeigt. Bekanntlich variiert die 
Empfanglichkeit eines Lichtempfangselementes entspre- 
chend der Anderung des Auftreffpunktes des einfallenden 
Lichtes auf dem Lichtempfangselement. Da bei der in Fig. 
12B gezeigten Anordnung das von dem Empfangsspiegel 21 
B auf das Lichtempfangselement 31 reflektierte Messlicht 
an einem Auftreffpunkt auf das Lichtempfangselement 31 
einfallt, dessen Abstand von der Achse Os des Lichtemp- 
fangselementes 31 unabhangig davon, welcher der drei 
Lichdeiter 26m, 26n und 26f gerade das Messlicht fuhrt, 
stets der gleiche ist, ist die Anderung der Empfindlichkeit 
des Lichtempfangselementes 31 infolge einer Anderung des 
Auftreffpunktes des Messlichtes auf dem Lichtempfangsele- 
ment 31 minimiert. 

[0061] Wie in Fig. 6 gezeigt, ist die Fokussierlinse 18 an 
einem Linsenrahmen 19 gehalten. Der Linsenrahmen 19 ist 
langs der optischen Achse des Zielfemrohrs 10 gefuhrt und 
hat eine Zahnstange 19a, die parallel zur optischen Achse 
verlaufL Der elektronische Entfemungsmesser enthalt einen 
AF-Motor (Autofokusmechanismus) 60, wie in Fig. 7 ge- 
zeigt ist. Ein Ritzel 61, das in die Zahnstange 19a eingreift, 
ist an einer drehenden Antriebswelle des AF-Motors 60 be- 
festigt. Bei diesem Aufbau wird die an dem Linsenrahmen 
19 gehaltene Fokussierlinse 18 durch den Antrieb des AF- 
Motors 60 langs der optischen Achse bewegt. Wie in Fig. 7 
gezeigt, hat der elektronische Entfemungsmesser einen Co- 
dierer (Winkelsensor/Vorrichtung zum Erfassen der Linsen- 
position) 62, der dem AF-Motor 60 zugeordnet ist. In dem 
erlauterten Ausfiihrungsbeispiel ist der Codierer 62 ein opti- 
scher Codierer, der eine Drehscheibe 62a mit mehreren nicht 
gezeigten radialen Schlitzen sowie einen Lichtsensor 62b 
hat, der einen Lichtsender und einen Lichtempfanger ent- 
halt. Lichtsender und Lichtempfanger sind dabei auf entge- 
gengesetzten Seiten der Drehscheibe 62a angeordnet. Der 
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Codierer 62 gibt an die Steuerschaltung SO ein Impulssignal 
aus, das dem Drehbetrag (Drehwinkel) des AF- Motors 60 
entspricht 

[0062] Fig* 10 ist ein BLockdiagramm eines Steuersy- 
stems, das den AF-Motor 60, den Codierer 62, den Motor 
73, die Steuerschaltung (Steuerung) 80 und einen externen 
Speicher 81, z. B. einen EEPROM enthalt. Dieses Steuersy- 
stem wird von der Steuerschaltung 80 gesteuert. Mit Zufuh- 
ren eines Startsignals aus der arithmeu'schen Steuerschal- 
tung 40 steuert die Steuerschaltung 80 den AF-Motor 60 
entsprechend dem von dem Codierer 62 zugefuhrten Im- 
pulssignal. Der AF-Motor 60 halt an, unmittelbar nachdem 
die Impulszahl des von dem Codierer 62 ausgegebenen Im- 
pulssignals den Wert erreicht hat, der dem von der Steuer- 
schaltung 40 berechneten Defokuswert entspricht. Die Im- 
pulszahl des von dem Codierer 62 ausgegebenen Impulssi- 
gnals wird in einem Speicher 80a gespeichert, der in der 
Steuerschaltung 80 vorgesehen ist. In dem externen Spei- 
cher 81 sind Informationen gespeichert, um festzustellen, ob 
die axiale Position der Fokussierlinse 18, die dem von dem 
Codierer 62 erfassten Drehwert (Drehwinkel) des Motors 60 
entspricht, in einem ersten Nahbereich (erster Nah-Scharf- 
stellbereich), einem zweiten Nahbereich (zweiter Nah- 
Scharfstellbereich) oder in einem Fembereich (Fern-Scharf- 
stellbereich) liegt. Die oben genannte erste kurze Entfer- 
nung ist in dem ersten Nahbereich, die oben genannte zweite 
kurze Entfernung in dem zweiten Nahbereich und die oben 
genannte groBe Entfernung in dem Fembereich enthalten. 
Der erste Nahbereich und der zweite Nahbereich sind je- 
weils als Entfemungsbereich festgelegt, in dem ein GroBteil 
des an dem Zielobjekt 16 reflektierten und durch die Objek- 
tivlinse 11 tretenden Messlichtes von dem Sende/Empfangs- 
spiegel 21 in einem AusmaB gesperrt wird, dass die auf die 
Eintrittsflache 26a des Lichdeiterbundels 26 treffende Be- 
leuchtungslichtmenge nicht mehr ausreicht, um die Entfer- 
nungsmessung durchzufiihren, wenn sich die Lichtab- 
schirmmaske 70 in der in den Fig. 8A und 9A gezeigten 
Nahstellung A befindet. Die Grenze des ersten Nahbereichs 
entsprechend der Grenze zwischen erstem Nahbereich und 
Fernbereich kann durch Andern beispielsweise der GroBe 
des Sende-TEmpfangsspiegels 21 und des Durchmessers des 
Lichdeiterbiindels 26 festgelegt werden. Entsprechend kann 
die Grenze des zweiten Nahbereichs entsprechend der 
Grenze zwischen erstem und zweitem Nahbereich ebenfalls 
durch Andem z. B. der GroBe des Sende-ZEmpfangsspiegels 
21 und des Durchmessers des Lichtleiterbundels 26 festge- 
legt werden. Der die Lichtabschirmmaske 70 bewegende 
Motor 73 ist an die Steuerschaltung 80 angeschlossen. 
[0063] Fig. 11 zeigt einen Prozess zum Ansteuern der 
Lichtabschirmmaske 70 bei eingeschaltetem Entfernungs- 
messschalter 45. Dieser Prozess wird von der Steuerschal- 
tung 80 durchgefuhrt. Zunachst wird in Schritt S101 die 
axiale Position der Fokussierlinse 18 entsprechend der in 
dem Speicher 80a gespeicherten Impulszahl erfasst, An- 
schlieBend wird in Schritt S102 unter Bezugnahme auf die 
in dem externen Speicher 81 gespeicherte Information er- 
mittelt, ob die erfasste Position der Fokussierlinse 18 in ei- 
nem vorbestimmten Nahbereich liegt, der den ersten und 
den zweiten Nahbereich umfasst. Ist dies der Fall (Ja in 
Schritt S102), so wird in Schritt S103 errnittelt, ob die er- 
fasste Position der Fokussierlinse in dem ersten Nahbereich 
liegt. Ist dies der Fall (Ja in Schritt S103), so wird in Schritt 
S104 errnittelt, ob die Lichtabschirmmaske 70 in der in den 
Fig. 8B und 9B gezeigten ersten Nahstellung angeordnet ist. 
Die Drehstellung der Lichtabschirmmaske 70 wird liber den 
vorstehend genannten, nicht gezeigten Sensor erfasst, der in 
dem Motor 73 vorgesehen ist. Wird in Schritt S 104 errnittelt, 
dass die Lichtabschirmmaske 70 nicht in der ersten Nahstel- 
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lung B angeordnet ist (Nein in Schritt S104), so wird der 
Motor 73 betatigt, um die Lichtabschirmmaske 70 so zu dre- 
hen, dass diese in der ersten Nahstellung B angeordnet wird 
(Schritt SI 05), und der Steuerablauf endet. Wird dagegen in 
5 Schritt SI 04 festgestellt, dass sich die Lichtabschirmmaske 
70 in der ersten Nahstellung B befindet (Ja in Schritt SI 04), 
so endet der Steuerablauf. Wird in Schritt S103 festgestellt, 
dass die erfasste Position der Fokussierlinse 18 nicht in dem 
ersten Nahbereich liegt (Nein in Schritt S103), so wird in 
to Schritt S106 errnittelt, ob die Lichtabschirmmaske 70 in der 
in den Fig. 8C und 9C gezeigten zweiten Nahstellung C an- 
geordnet isu Wird in Schritt SI 06 festgestellt, dass sich die 
Lichtabschirmmaske 70 nicht in der zweiten Nahstellung C 
befindet (Nein in Schritt S106), so wird in Schritt S107 der 
15 Motor 73 betatigt, um die Lichtabschirmmaske 70 so zu dre- 
hen, dass diese in der zweiten Nahstellung C angeordnet 
wird, und der Steuerablauf endet. Wird dagegen in Schritt 
S106 festgestellt, dass sich die Lichtabschirmmaske 70 in 
der zweiten Nahstellung C befindet (Ja in Schritt S106), so 
20 endet der Steuerablauf. Wird in Schritt S102 festgestellt, 
dass die erfasste Position der Fokussierlinse 18 weder in 
dem ersten noch in dem zweiten Nahbereich liegt (Nein in 
Schritt S102), so wird in Schritt S108 festgestellt, ob sich 
die Lichtabschirmmaske in der in den Fig. 8A und 9A ge- 
25 zeigten Fernstellung A befindet. 

[0064] Wird in Schritt SI 08 festgestellt, dass sich die 
Lichtabschirmmaske 70 nicht in der Fernstellung A befindet 
(Nein in Schritt S108), so wird in Schritt S109 der Motor 73 
betatigt, um die Lichtabschirmmaske 70 so zu drehen, dass 
30 dieser in der Nahstellung A angeordnet wird, und der Steu- 
erablauf endet. Wird dagegen in Schritt S108 festgestellt, 
dass sich die Lichtabschirmmaske 70 in der Fernstellung A 
befindet (Ja in Schritt S108), so endet der Steuerablauf. 
[0065] In dem vorstehend erlauterten Prozess wird die 
35 Lichtabschirmmaske 70 in der in den Fig. 8A und 9A ge- 
zeigten Fernstellung A angeordnet, wenn die axiale Position 
der Fokussierlinse 18 in dem Fernbereich liegt. Liegt die 
axiale Position der Fokussierlinse 18 in dem ersten Nahbe- 
reich, so wird die Lichtabschirmmaske 70 in der in den Fig. 
40 8B und 9B gezeigten ersten Nahstellung B angeordnet. 
Liegt die dagegen die axiale Position der Fokussierlinse 18 
in dem zweiten Nahbereich, so wird die Lichtabschirm- 
maske 70 in der in den Fig. 8C und 9C gezeigten zweiten 
Nahstellung C angeordnet. Die Lichtabschirmmaske 70 
45 wird also entsprechend der axialen Position der Fokussier- 
linse 18, die sich in ihrer Scharfstellposition befindet, und 
damit entsprechend der berechneten Entfernung angeordnet. 
In Abhangigkeit der Entfernung des Zielobjektes 16 von 
dem elektronischen Entfemungsmesser kann so von den 
50 drei Lichtleitern 26m, 26n und 26f ein geeigneter Lichtleiter 
ausgewahlt werden, um das Messlicht auf das Lichtemp- 
fangselement 31 treffen zu lassen. 
[0066] In dem zweiten Ausfuhrungsbeispiel des elektroni- 
schen Entfemungsmessers sind die Austrittsendabschnitte 
55 der drei Lichtleiter 26m, 26n und 26f in dichter Anordnung 
so gebiindelt, dass alle Austrittsflachen der drei Lichdeiter 
26m, 26n und 26f, wie in Fig. 12B gezeigt, auf einem Kreis 
g um die Achse Os des Lichtempfangselementes 31 herum 
angeordnet sind, um die Anderung der Empfindlichkeit des 
60 Lichtempfangselementes 31 infolge einer Anderung des 
Auftreffpunktes des auf das Lichtempfangselement fallen- 
den Lichtes zu minimieren. Fur die Lichtleiter 26f, 26m und 
26n konnen jedoch auch jeweils eine Kondensorlinse 32'f, 
32'm bzw. 32'n, ein Bandpassfilter 34T, 34'm bzw. 34'n so- 
65 wie ein Lichtempfangselement 31'f, 31'm bzw. 31'n vorgese- 
hen werden, wie Fig. 13 zeigt. 

[0067] In dem zweiten Ausfuhrungsbeispiel sind die 
Durchmesser der drei Lichdeiter 26m, 26n, 26f identisch. 
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Altemativ konnen jedoch die Lichtleiter unterschiedliche 
Durchniesser haben, z. B. entsprechend dem ersten Ausfuh- 
rungsbeispiel, so dass die Durchmesser der Lichtleiter den 
Durchmessern der Offnungen 70a, 70b und 70c entspre- 
chen. 5 
[0068] In dem ersten und dem zweiten Ausfiihrungsbei- 
spiel sind jeweils drei Lichtleiter vorgesehen. Es konnen je- 
doch auch zwei oder raehr als drei Lichdeiter vorgesehen 
sein. 

[0069] In dem zweiten Ausfuhrungsbeispiel des elektroni- 10 
schen Entfemungsmessers wird unter den drei Lichtleitern 
26m, 26n und 26f entsprechend der erfassten axialen Posi- 
tion der Fokussierlinse 18 ein geeigneter Lichtleiter ausge- 
wahlt, um das Messlicht auf das Lichtempfangselement 31 
zu fuhren. Die Erfindung ist jedoch nicht auf dieses beson- 15 
dere Ausfuhrungsbeispiel beschrankt. Beispielsweise kann 
in einem in Fig. 14 gezeigten Prozess zum Ansteuem der 
Lichtabschirmmaske unter den drei Lichtleitern 26m, 26n 
und 26f derjenige Lichtleiter ausgewahlt werden, uber den 
das Lichtempfangselement 31 das Messlicht mit der groBten 20 
Lichtmenge empfangt. Alteraativ kann in einem in Fig. 15 
gezeigten Prozess zum Ansteuem der Lichtabschirmmaske 
unter den drei Lichdeitem 26m, 26n und 26f ein Lichdeiter 
entsprechend der von dem Lichtempfangselement 31 emp- 
fangenen Messlichtmenge ausgewahlt werden. 25 
[0070] Der in Fig. 14 gezeigte Prozess zum Ansteuem der 
Lichtabschirmmaske fuhrt die Steuerschaltung 80 durch. 
Zunachst wird mit Einschalten des Entfernungsmessschal- 
ters 45 in Schritt S201 der Motor 73 betatigt, um die Licht- 
abschirmmaske 70 so zu drehen, dass sie in der Fernstellung 30 
A angeordnet wird. AnschlieBend wird in Schritt S202 das 
Lichtaussendeelement 23 so gesteuert, dass es das Messlicht 
ausgibt, und zugleich in Schritt S203 die Messlichtmenge 
(Lichtmenge A) in einem Lichtmengenspeicher, z. B. dem 
Speicher 80a, gespeichert, der in der Steuerschaltung 80 35 
vorgesehen ist. AnschlieBend wird in Schritt S204 der Mo- 
tor 73 betatigt, um die lichtabschirmmaske 70 so zu drehen, 
dass sie in der ersten Nahstellung B angeordnet wird. Dann 
wird in Schritt S205 das Lichtaussendeelement 23 so ange- 
steuert, dass es das Messlicht ausgibt, und zugleich in 40 
Schritt S206 die Messlichtmenge (Lichtmenge B) in dem 
Lichtmengenspeicher gespeichert. AnschlieBend wird in 
Schritt S207 der Motor 73 betatigt, um die Lichtabschirm- 
maske 70 so zu drehen, dass sie in der zweiten Nahstellung 
C angeordnet wird. Dann wird in Schritt S208 das lichtaus- 45 
sendeelement 23 so angesteuert, dass es das Messlicht aus- 
gibt, und zugleich in Schritt S209 die Messlichtmenge 
(Lichtmenge C) in dem Lichtmengenspeicher gespeichert. 
[0071] Dann wird in Schritt S210 ermittelt, ob die Licht- 
mengen A, B und C jeweils groBer als eine vorbestimmte 50 
Lichtmenge sind. Ist keine der Lichtmengen A, B und C gro- 
Ber als diese vorbestimmte Lichtmenge (Nein in Schritt 
S210), so wird in Schritt S211 auf der Anzeigevorrichtung 
42 eine Mitteilung oder ein Symbol angezeigt, die bzw. das 
auf visuellem Wege daruber informiert, dass das Zielobjekt 55 
weiter als die maximal messbare Entfernung entfernt ist, 
d. h. dass es wegen der nicht ausreichenden Menge an auf 
das Lichtempfangselement 31 treffendem Messlichtes nicht 
moglich ist, die Entfemungsmessung durchzufuhren. Wird 
dagegen in Schritt S210 ermittelt, dass mindestens eine der 60 
Lichtmengen A, B und C groBer als die vorbestimmte Licht- 
menge ist (Ja in Schritt S210), so werden in Schritt S212 die 
Lichtmengen A, B und C miteinander verglichen, um zu be- 
stimmen, welche der Lichtmengen A, B und C die groBte ist. 
AnschlieBend wird in Schritt S213 der Motor 73 betatigt, 65 
um die Lichtabschirmmaske 70 so zu drehen, dass diese in 
einer der drei Stellungen A, B oder C angeordnet wird, in 
der man die groBte Lichtmenge erhalt. Ist beispielsweise die 



Lichtmenge A unter den drei Lichtmengen A, B und C die 
groBte, so wird die Lichtabschirmmaske 70 in der Fernstel- 
lung A angeordnet, so dass die Entfemungsmessung mit 
dem dritten Lichtleiter 26f durchgefuhrt wird. AnschlieBend 
wird in Schritt S214 die Entfemungsmessung durchgefuhrt, 
und der Steuerablauf endet. 

[0072] Der in Fig. 1 5 gezeigte Prozess zum Ansteuem der 
Lichtabschirmmaske wird von der Steuerschaltung 80 
durchgefuhrt. Zunachst wird mit Einschalten des Entfer- 
nungsmessschalters 45 in Schritt S301 der Motor 73 beta- 
tigt, um die Lichtabschirmmaske 70 so zu drehen, dass sie in 
der zweiten Nahstellung C angeordnet wird. AnschlieBend 
wird in Schritt S302 das Lichtaussendeelement 23 so ange- 
steuert, dass es das Messlicht ausgibt, in Schritt S303 ein 
Zeitgeber t gestartet und in Schritt S304 ermittelt, ob der 
Zeitgeber t eine vorbestimmte Zeit uberschritten hat. Wird 
in Schritt S304 festgestellt, dass der Zeitgeber t die vorbe- 
stimmte Zeit noch nicht uberschritten hat (Nein in Schritt 

5304) , so wiederholt der Steuerablauf Schritt S304. Wird 
dagegen in Schritt S304 festgestellt, dass der Zeitgeber t die 
vorbestimmte Zeit uberschritten hat (Ja in Schritt S304), so 
wird in Schritt S305 ermittelt, ob die von dem Lichtemp- 
fangselement 31 empfangene Lichtmenge groBer als eine 
vorbestimmte Lichtmenge ist. Ist dies der Fall (Ja in Schritt 

5305) , so fahrt der Steuerablauf mit Schritt S306 fort, um 
die Entfemungsmessung mit dem zweiten Lichtleiter durch- 
zufuhren, Ist dagegen die Lichtmenge gleich oder kleiner als 
die vorbestimmte Lichtmenge (Nein in Schritt S305), so 
wird in Schritt S307 der Motor 73 betatigt, um die Lichtab- 
schirmmaske 70 so zu drehen, dass sie in der ersten Nahstel- 
lung B angeordnet wird. AnschlieBend wird die Lichtmenge 
des Lichtempfangselementes 31 in Schritt S308 geloscht. 
Dann wird in Schritt S309 das Lichtaussendeelement 23 so 
angesteuert, dass es das Messlicht ausgibt, in Schritt S3 10 
wiederum der Zeitgeber t startet und in Schritt S3 11 ermit- 
telt, ob der Zeitgeber t eine vorbestimmte Zeit uberschritten 
hat. Wird in Schritt S3 11 festgestellt, dass der Zeitgeber t die 
vorbestimmte Zeit noch nicht uberschritten hat (Nein in 
Schritt S3 11), so wiederholt der Steuerablauf den Schritt 
S3 11. Wird dagegen in Schritt S3 11 festgestellt, dass der 
Zeitgeber t die vorbestimmte Zeit uberschritten hat (Ja in 
Schritt S311), so wird in Schritt S312 ermittelt, ob die von 
dem Lichtempfangselement 31 empfangene Lichtmenge 
groBer als die vorstehend genannte vorbestimmte Licht- 
menge ist. Ist dies der Fall (Ja in Schritt S312), so fahrt der 
Steuerablauf mit Schritt S313 fort, um die Entfemungsmes- 
sung mit dem ersten Lichtleiter 26m durchzufuhren. Ist da- 
gegen die Lichtmenge gleich oder kleiner als die vorbe- 
stimmte Lichtmenge (Nein in Schritt S312), so wird in 
Schritt S314 der Motor 73 betatigt, um die Lichtabschirm- 
maske 70 so zu drehen, dass sie in der Fernstellung A ange- 
ordnet wird, und anschlieBend in Schritt S315 die Licht- 
menge des Lichtempfangselementes 31 geloscht. Dann wird 
in Schritt S3 16 das Lichtaussendeelement 23 so angesteuert, 
dass es das Messlicht ausgibt, in Schritt S3 17 wiederum der 
Zeitgeber t gestartet und in Schritt S318 ermittelt, ob der 
Zeitgeber t die vorbestimmte Zeit uberschritten hat. Wird in 
Schritt S3 18 festgestellt, dass der Zeitgeber t die vorbe- 
stimmte Zeit noch nicht uberschritten hat (Nein in Schritt 

5318) , so wiederholt der Steuerablauf Schritt S318. Wird 
dagegen in Schritt S3 18 festgestellt, dass der Zeitgeber die 
vorbestimmte Zeit uberschritten hat (Ja in Schritt S3 18), so 
wird in Schritt S319 ermittelt, ob die von dem Lichtemp- 
fangselement 31 empfangene Lichtmenge groBer als die 
vorbestimmte Lichtmenge ist. Ist dies der Fall (Ja in Schritt 

53 19) , so fahrt der Steuerablauf mit Schritt S320 fort, um 
die Entfemungsmessung mit dem dritten Lichtleiter 26f 
durchzufuhren. AnschlieBend endet der Steuerablauf. Ist die 
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Lichtmenge gleich oder kleiner als die vorbestimmte Licht- 
menge (Nein in Schritt S3 19), so wird in Schritt S321 auf 
der Anzeigevorrichtung 42 eine Nachricht oder ein Symbol 
angezeigt, die bzw. das dariiber informiert, dass das Zielob- 
jekt weiter als die maximal messbare Enlfemung entfemt 5 
ist, d. h. es wegen der nicht ausreichenden Menge des auf 
das Licbtempfangselement 31 treffenden Messlichtes nicht 
moglich ist, die Entfemungsmessung diirchzufuhren, und 
der Steuerablauf endet. 

[0073] Das oben erlauterte zweite Ausfuhrungsbeispiel ist 10 
ein Beispiel eines mit einem Autofokussystem ausgestatte- 
ten Vermessungsinstrumentes, auf das die Erfindung ange- 
wendet wird. Die Erfindung kann jedoch auch auf ein Ver- 
messungsinstrument angewendet werden, das mit einem 
manuellen Scharfstellsystem ausgestattet ist. In dem zwei- 15 
ten Ausfuhrungsbeispiel werden namlich die eingangs er- 
wahnten, der Erfindung zugrundeliegenden Aufgaben unab- 
hangig davon geidst, ob ein Autofokussystem vorhanden ist 
AuBerdem kann die Lichtabschirmmaske 70 manuell ge- 
dreht werden, um sie in der Femstellung A, der ersten Nah- 20 
stellung B oder der zweiten Nahstellung C anzuordnen. In 
diesem Fall kann die Ermittlung, in welcher der drei Stellun- 
gen A, B und C die Lichtabschirmmaske 70 anzuordnen ist, 
dadurch erfolgen, dass zunachst die axiale Position der Fo- 
kussierlinse 18 nach deren manueller Einstellung erfasst und 25 
anschlieBend ermittelt wird, ob die der erfassten axialen Po- 
sition der Fokussierlinse 18 entsprechende Entfernung in 
dem ersten Nahbereich, dem zweiten Nahbereich oder dem 
Fernbereich liegt. 

[0074] Die Fig. 16A bis 20 zeigen ein drittes Ausfuh- 30 
rungsbeispiel des mit einem Autofokussystem ausgestatte- 
ten elektronischen Entfernungsmessers. Das dritte Ausfuh- 
rungsbeispiel ist im wesentiichen gleich dem ersten Ausfuh- 
rungsbeispiel, abgesehen davon, dass an Stelle eines aus 
mehr als einem Lichtleiter bestehenden Lichtleiterbiindels 35 
ein einziger Lichtleiter 260 mit groBem Durchmesser als 
Lichdeitoptik verwendet wird, und dass eine kreisformige 
Lichtabschirmmaske 72 mit mehreren Offnungen 72a und 
72b unterschiedlichen Durchmessers unmittelbar unterhalb 
einer Eintrittsflache 260a des Lichtleiters 260 angeordnet 40 
ist Der mit dem groBen Durchmesser versehene Lichtleiter 
260, der dem Lichtleiterbundel 26 des ersten und des zwei- 
ten Ausfuhrungsbeispiels entspricht, wird so verwendet, 
dass die Eintrittsflache 260a zuverlassig das Messlicht emp- 
fangen kann, das bei in kurzer Entfernung angeordnetem 45 
Zielobjekt 16 an einer Stelle auf die Eintrittsflache 260a 
trifft, die von der Mitte der Eintrittsflache abweicht Teile 
oder Elemente des dritten Ausfuhrungsbeispiels, die mit de- 
nen des ersten Ausfuhrungsbeispiels identisch sind, tragen 
die entsprechenden Bezugszeichen des ersten Ausfiihrungs- 50 
beispiels und werden im Folgenden nicht nochmals im De- 
tail erlautert 

[0075] Fig, 16A zeigt schrafTlert angedeutet, das auf die 
Eintrittsflache 260a des Lichtleiters 260 fallende Messlicht, 
wenn der elektronische Entfemungsmesser die Entfernung 55 
des in der oben genannten groBen Entfernung angeordneten 
Zielobjektes 16 misst Fig, 16B zeigt, schraffiert angedeutet, 
das auf die Eintrittsflache 260a des Lichtleiters 260 fallende 
Messlicht, wenn der elektronische Entfemungsmesser die 
Entfernung des in der der oben genannten ersten kurzen Ent- 60 
fernung angeordneten Zielobjektes 16 misst Fig, 16C zeigt, 
schraffiert angedeutet, das auf die Eintrittsflache 260a des 
LichOeiters 260 fallende Messlicht, wenn der elektronische 
Entfemungsmesser die Entfernung des in der oben genann- 
ten zweiten Entfernung angeordneten Zielobjektes 16 misst 65 
Da der Durchmesser des Lichdeiters 260 groB ist, kann das 
Messlicht ungeachtet der Entfernung des Zielobjektes 16 
von dem Entfemungsmesser iiber die Eintrittsflache 260a in 
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den Lichtleiter 260 eintreten. Die kreisformige Lichtab- 
schirmmaske 72 ist unmittelbar unterhalb der Eintrittsflache 
260a so angeordnet, dass sie die kreisformige Eintrittsflache 
260a vollstandig abdeckt, um die auf die Eintrittsflache 260a 
fallende Messlichtmenge entsprechend der Entfernung des 
Zielobjektes 16 von dem Entfemungsmesser einzustellen, 
[0076] Wie in Fig, 17 gezeigt, hat die kreisformige Licht- 
abschirmmaske 72 eine groBe zentrale Ofinung 72a, uber 
die ein zentraler Teil der Eintrittsflache 260a gegenuber dem 
Empfangsspiegel 21b des Sende-/Empfangsspiegels 21 frei- 
liegt Weiterhin hat die Lichtabschirmmaske 72 auf gegen- 
uberliegenden Seiten der zentralen Ofinung 72a jeweils 
zwei seitliche Offnungen (innere Offnung und auBere Off- 
nung) 72b unterschiedlichen Durchmessers. Der Durchmes- 
ser der inneren seitlichen Offnung 72b, die sich naher der 
zentralen Offnung 72a befindet, ist groBer als der der auBe- 
ren seitlichen Offnung 72b. Das an dem Lichtempfangsspie- 
gel 21b reflektierte Messlicht trifft iiber die zentrale groBe 
Offnung 72a auf die Eintrittsflache 260a, wenn sich das 
Zielobjekt 16 in groBer Entfernung befindet. Dagegen trifft 
das an dem Empfangsspiegel 21b reflektierte Licht uber die 
inneren seitlichen Offnungen 72b, wenn sich das Zielobjekt 
16 in der ersten kurzen Entfernung befindet, und iiber die au- 
Beren seitlichen Offnungen 72b, wenn sich das Zielobjekt 
16 in der zweiten kurzen Entfernung befindet, auf die Ein- 
trittsflache 260a. Die inneren und die auBeren seitlichen Off- 
nungen 72b sind jeweils kleiner als die zentrale groBe Off- 
nung 72a, um zu verhindern, dass eine groBe Menge an die 
Entfemungsmessung negativ beeinflussendem Licht wie di- 
rektes oder reflektiertes Sonnenlicht auf die Eintrittsflache 
260a fallt Misst der elektronische Entfemungsmesser die 
Entfernung des in kurzer Entfernung angeordneten Zielob- 
jektes 16, so ergeben sich mit den seitlichen Offnungen 72b, 
die jeweils einen kleinen Durchmesser haben, keine Pro- 
bleme, da eine ausreichende Menge an Messlicht auf die 
Eintrittsflache 260a des Lichdeiters 260 trifft. In Fig, 18 
zeigt eine kreisformige Lichtabschirmmaske 72' als Ab- 
wandlung, die vier Paare von seitlichen Offnungen 72b' in 
gleichwinkligen Abstanden, namlich in Winkelabstanden 
von 90° hat Die so aufgebaute Lichtabschirmmaske 72' er- 
hoht die Menge des auf die Eintrittsflache 260a treffenden 
Messlichtes, wenn der elektronische Entfemungsmesser die 
Entfernung des im Nahbereich angeordneten Zielobjektes 
16 misst. 

[0077] Fig. 19A zeigt eine kreisformige Lichtabschirm- 
maske 172, die ein wei teres Ausfuhrungsbeispiel der Licht- 
abschirmmaske darstellt In diesem Ausfuhrungsbeispiel hat 
die kreisformige Lichtabschirmmaske 172 eine groBe zen- 
trale Offnung 172a so wie beiderseits der zentralen Offnung 
172a zwei radiale Schlitze 172b. Das innere Ende jedes ra- 
dialen Schlitzes 172b steht in Verbindung nut der zentralen 
Offnung 172a. Mit dieser Lichtabschirmmaske 172 werden 
ahnliche technische Wirkungen erreicht wie mit der Licht- 
abschirmmaske 72. 

[0078] Fig. 19B zeigt eine kreisformige Lichtabschirm- 
maske 172' als weiteres Ausfuhrungsbeispiel. Die Lichtab- 
schirmmaske 172' hat eine groBe zentrale Offnung 172a' und 
um die zentrale Offnung 172a' herum vier radiale Schlitze 
172b' in gleichwinkligen Abstanden. Mit dieser Lichtab- 
schirmmaske 172' sind ahnliche technische Wirkungen wie 
mit der Lichtabschirmmaske 72 zu erwarten. 
[0079] Fig, 20A zeigt eine kreisformige Lichtabschirm- 
maske 272 als weiteres Ausfuhrungsbeispiel. Die Lichtab- 
schirmmaske 272 hat eine groBe zentrale Offnung 272a und 
beiderseits der zentralen Offnung 272a zwei radiale, keilfor- 
mige Ausschnitte 272b. Die inneren Enden der Ausschnitte 
272b schlieBen an die groBe zentrale Offnung 272a an. Die 
Breite jedes Ausschnitts 272b nimmt groBer werdendem 
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Abstand von der zentralen Offnung 272a ab. Mit dieser 
Lichtabschirmmaske 272 sind ahnliche technische ErTekte 
wie rait der Lichtabschirmmaske 72 zu erwarten. Fig. 20B 
zeigt eine kreisformige Uchtabschirrnmaske 272* als weite- 
res Ausfuhrungsbeispiel. Die Lichtabschirmmaske 272' hat 5 
eine grofie zentrale Offnung 272a' und um die zentrale Off- 
nung 272a' in gleichwinkligen Abstanden vier radiale, keil- 
fbrmige Ausschnitte 272b*. Mit dem Lichtabschirmelement 
272* sind ahnliche technische Wirkungen wie mit dem 
Lichtabschirmelement 72 zu erwarten. Entsprechend dem 10 
zweiten Ausfuhrungsbeispiel werden die der Erfindung zu- 
grundeliegenden Aufgaben in dem dritten Ausfuhrungsbei- 
spiel ungeachtet dessen geldst, ob ein Autofokussystem vor- 
gesehen ist oder nicht. 

[0080] In den erlauterten Ausfuhrungsbeispielen wird ein 15 
Porroprismenaufrichtsystern 12 als Aufrichtoptik sowie als 
Strahlteileroptik eingesetzt, die das auftreffende Lichtbun- 
del in zwei Lichtbundel teil, von denen eines auf die AF- 
Einheit 50 zulauft, wahrend das andere auf das Okular 14 
zulauft. An S telle des Porroprismenaufrichtsy stems 12 kon- 20 
nen auch andere optische Elemente verwendet werden. 
[0081] In den oben erlauterten Ausfuhrungsbeispielen 
werden jeder Lichtleiter des Lichtleiterbundels 26 und der 
Lichtleiter 260 jeweils als Lichtleitoptik eingesetzt. Die Er- 
findung ist jedoch nicht auf einen solchen bestimmten Licht- 25 
leiter oder ein solches Lichtleitbiindel beschrankt. Beispiels- 
weise kann das Lichtleiterbiindel 26 oder der Lichtleiter 
260, wie in Fig. 21 gezeigt, durch eine SELFOC-Linse 
(SELFOC-Lichtleiter), oder, wie in Fig. 22 gezeigt, durch 
eine Umkehr- oder Zwischenabbildungslinsengruppe ersetzt 30 
werden. 

[0082] Wie aus obiger Beschreibung hervorgeht, ist bei 
dem mit einem optischen Entfernungsmesser versehenen 
Vermessungsinstrument in einfacher Weise das eingangs ge- 
schilderte Problem iiberwunden, dass die bei im Nahbereich 35 
angeordnetem Zielobjekt auf ein Lichtempfangselement 
treffende Messlichtmenge abnimrnt, wodurch die Genauig- 
keit der Entfernungsmessung beeintrachtigt und die minimal 
messbare Entfernung groB wird, ohne dass dabei die Lei- 
stungseigenschaften der von dem optischen Entfernungs- 40 
messer vorgenommenen Entfernungsmessung beeintrach- 
tigt werden, wenn die Entfernung eines Zielobjektes bei ma- 
ximal messbarer Entfernung gemessen wird. AuBerdem 
wird durch ein erfindungsgemaBes Vermessungsinstrument, 
das einen optischen Entfernungsmesser und eine Scharfen- 45 
erfassungsvorrichtung zum Erfassen des Scharfstellzustan- 
des einer Entfernungsmessoptik hat, das eingangs geschil- 
derte Problem in einfacher Weise iiberwunden, ohne dabei 
die Leistungseigenschaften der von dem optischen Entfer- 
nungsmesser vorgenommenen Entfernungsmessung zu be- 50 
eintrachtigen, wenn die Entfernung eines Objektes in maxi- 
mal messbarer Entfernung gemessen wird. 
[0083] In dem oben erlauterten zweiten Ausfuhrungsbei- 
spiel des elektronischen Entfernungsmessers konnen die 
arithmetische Steuerschaltung 40 und die Steuerschaltung 55 
80 in einer einzigen Steuerschaltung integriert werden. 

Patentanspriiche 

1. Vermessungsinstrument mit 60 
einer Entfernungsmessoptik mit einer Objektivlinse, 
iiber welche die Entfernung eines Objektes zu dem 
Vermessungsinstrument gemessen wird, und 
einem optischen Entfernungsmesser mit einem hinter 
der Objektivlinse angeordneten Reflexionselement, ei- 65 
ner Sendeoptik, die Messlicht iiber das Reflexionsele- 
ment und die Objektivlinse auf das Objekt aussendet, 
und einer Empfangsoptik, die einen Teil des Messlich- 
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tes empfangt, der an dem Objekt reflektiert wird, an- 
schlieBend durch die Objektivlinse tritt und von dem 
Reflexionselement nicht an seiner Lichtausbreitung ge- 
hindert wird, dadurch gekennzeichnet, dass 
die Empfangsoptik mehrere Lichtleitoptiken derart ent- 
halt, dass das dem Objekt reflektierte Messlicht in Ab- 
hangigkeit der Objektentfernung wahlweise auf das 
Eintrittsende einer der Lichtleitoptiken fallt. 

2. Vermessungsinstrument nach Anspruch 1, dadurch 
gekennzeichnet, dass unter den Lichtleitoptiken minde- 
stens eine auf eine groBe Objektentfernung bezogene 
Lichtleitoptik einen vergroBerten Durchmesser hat. 

3. Vermessungsinstrument nach Anspruch 1, gekenn- 
zeichnet durch eine IJchtabschirmmaske mit mehreren 
Offnungen, wobei das an dem Objekt reflektierte Mess- 
licht jeweils iiber eine der Offnungen wahlweise auf 
das Eintrittsende der zugehorigen Lichtleitoptik fallt. 

4. Vermessungsinstrument nach Anspruch 3, dadurch 
gekennzeichnet, dass die Durchmesser der Offnungen 
voneinander verschieden und die Durchmesser der 
Lichtleitoptiken einander gleich sind. 

5. Vermessungsinstrument nach Anspruch 3, dadurch 
gekennzeichnet, dass die Durchmesser der Offnungen 
voneinander verschieden sind und die Durchmesser der 
Lichtleitoptiken den Durchmessern der ihnen zugeord- 
neten Offnungen der Lichtabschirmmaske entsprechen. 

6. Vermessungsinstrument nach einem der Anspriiche 
3 bis 5, gekennzeichnet durch eine Verstellvorrichtung 
zum Bewegen der Lichtabschirmmaske derart, dass das 
an dem Objekt reflektierte Messlicht wahlweise auf das 
Eintrittsende der jeweiligen Lichtleitoptik trifft. 

7. Vermessungsinstrument nach Anspruch 6, dadurch 
gekennzeichnet, dass die Entfernungsmessoptik eine 
Scharfstelllinse enthalt, die zum Scharfstellen auf das 
Objekt bewegbar ist, und dass das Vermessungsinstru- 
ment eine Erfassungsvorrichtung zum Erfassen der 
axialen Position der Scharfstelllinse enthalt, wobei die 
Verstellvorrichtung die Lichtabschirmmaske entspre- 
chend der erfassten axialen Position der Scharfstell- 
linse bewegt. 

8. Vermessungsinstrument nach Anspruch 6, gekenn- 
zeichnet durch eine Steuerung, welche die Verstellvor- 
richtung so ansteuert, dass diese die Lichtabschirm- 
maske entsprechend einem Zustand der Empfangsoptik 
bei Empfang des an dem Objekt reflektierten Messlich- 
tes bewegt. 

9. Vermessungsinstrument nach Anspruch 8, dadurch 
gekennzeichnet, dass die Steuerung einen Maskende- 
tektor enthalt, der diejenige Stellung der Lichtab- 
schirmmaske erfasst, in der die Menge des an dem Ob- 
jekt reflektierten und von der Empfangsoptik empfan- 
genen Messlichtes maximal wird, und dass die Steue- 
rung die Verstellvorrichtung so ansteuert, dass diese 
die Lichtabschirmmaske entsprechend der erfassten 
Stellung der Lichtabschirmmaske bewegt. 

10. Vermessungsinstrument nach Anspruch 8, dadurch 
gekennzeichnet, dass die Steuerung die Verstellvor- 
richtung so ansteuert, dass diese die Lichtabschirm- 
maske so bewegt, dass das an dem Objekt reflektierte 
Messlicht auf das Eintrittsende einer anderen der Licht- 
leitoptiken fallt, wenn die Menge des an dem Objekt 
reflektierten und iiber die eine Lichtleitoptik empfange- 
nen Messlichtes in einer vorbestimmten Zeit nicht gro- 
Ber als eine vorbestimmte Lichtmenge ist. 

11. Vermessungsinstrument nach einem der vorherge- 
henden Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, dass die 
Mittelachsen der Eintrittsflachen der Lichtleitoptiken 
auf einer geraden Linie angeordnet sind. 
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12. Vermessungsinstrument nach Anspruch 1, dadurch 
gekennzeichnet, dass die Empfangsoptik ein Lichtemp- 
fangselement enthalt, auf das iiber die Lichtleitoptiken 
das an dem Objekt refleklierte Messlicht fallt, und dass 
die Mittelachsen der Austrittsflachen der Licbtleitopti- 5 
ken auf einem Kreis um die Achse des Lichtempfangs- 
elementes angeordnet sind. 

13. Vermessungsinstrument nach Anspruch 1, dadurch 
gekennzeichnet, dass die Empfangsoptik mehrere 
Lichtempfangselemente enthalt, auf die iiber die ihnen 10 
jeweils zugeordneten Lichtleitoptiken das an dem Ob- 
jekt reflektierte Messlicht fallt 

14. Vermessungsinstrument nach einem der vorherge- 
henden Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, dass die 
Lichtleitoptiken jeweils einen Lichtleiter enthalten. 15 

15. Vermessungsinstrument nach einem der vorherge- 
henden Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, dass die 
Entfernungsmessoptik ein Zielfernrohr zum Anvisie- 
ren des Objektes enthalt. 

16. Vermessungsinstrument nach einem der vorherge- 20 
henden Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, dass 

das Reflexionselement einen Parallelplattenspiegel mil 
einer Vorderflache und einer hierzu parallelen Ruckfia- 
che enthalt, 

die Vorderflache der Objektivlinse zugewandt und als 25 
Sendespiegel ausgebildet ist, der das Messlicht iiber 
die Objektivlinse auf das Objekt reflektiert, 
die Riickflache als Empfangsspiegel ausgebildet ist, 
der das an dem Objekt reflektierte Messlicht reflektiert, 
und 30 
das Messlicht, das an dem Objekt reflektiert wird, an- 
schlieBend durch die Objektivlinse tritt und von dem 
Reflexionselement nicht an seiner Lichtausbreitung ge- 
hindert wird, von dem Empfangsspiegel entsprechend 
der Objektentfemung wahlweise auf das Eintrittsende 35 
der jeweiligen Lichtleitoptik reflektiert wird. 

17. Vermessungsinstrument nach einem der Ansprii- 
che 3 bis 16, dadurch gekennzeichnet, dass die Licht- 
abschirmmaske sektortormig ist. 

18. Vermessungsinstrument nach einem der Ansprii- 40 
che 7 bis 17, dadurch gekennzeichnet, dass die Emp- 
fangsoptik einen zwischen dem Reflexionselement und 
der Scharfstelllinse angeordneten wellenlangenselekti- 
ven Spiegel enthalt. 

19. Vermessungsinstrument mit 45 
einer Entfernungsmessoptik mit einer Objektivlinse, 
iiber welche die Entfernung eines Objektes zu dem 
Vermessungsinstrument gemessen wird, 

einem optischen Entfemungsmesser mit einem hinter 
der Objektivlinse angeordneten Reflexionselement, ei- 50 
ner Sendeoptik, die Messlicht iiber das Reflexionsele- 
ment und die Objektivlinse aussendet, und einer Emp- 
fangsoptik, die Licht empfangt, das an dem Objekt re- 
flektiert wird, anschlieBend durch die Objektivlinse 
tritt und von dem Reflexionselement nicht an seiner 55 
Lichtausbreitung gehindert wird, wobei die Empfangs- 
optik eine Lichtleitoptik enthalt, die eine Eintrittsflache 
hat, auf die das an dem Objekt reflektierte Messlicht 
trifft, dadurch gekennzeichnet, dass * 
der Durchmesser der Lichtleitoptik so bemessen ist, 60 
dass das an dem Objekt reflektierte Messlicht unabhan- 
gig von der Objektentfemung auf die Eintrittsflache der 
Lichtleitoptik fallt, und 

eine Lichtabschirmmaske vorgesehen ist, die eine zen- 
trale Offnung, iiber die ein zentraler Teil der Eintritts- 65 
flache zum Reflexionselement hin freiliegt, und minde- 
stens eine seitliche Offnung hat, iiber die ein auBeraxia- 
ler Teil der Eintrittsflache zum Reflexionselement hin 
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freiliegt, wobei der Durchmesser der seitlichen Off- 
nung kleiner als der Durchmesser der zentralen Off- 
nung ist. 

20. Vermessungsinstrument nach Anspruch 19, da- 
durch gekennzeichnet, dass mindestens zwei seitliche 
Offnungen vorgesehen sind, deren Durchmesser mit 
groBer werdendem Abstand von der zentralen Offnung 
kleiner wird. 

21. Vermessungsinstrument nach Anspruch 19, da- 
durch gekennzeichnet, dass die seitliche Offnung an 
die zentrale Offnung anschlieBt. 

22. Vermessungsinstrument nach einem der Ansprii- 
che 19 bis 21, dadurch gekennzeichnet, dass die Licht- 
leitoptiken jeweils einen Lichtleiter enthalten. 

23. Vermessungsinstrument nach einem der Ansprii- 
che 19 bis 22, dadurch gekennzeichnet, dass die Entfer- 
nungsmessoptik ein Zielfernrohr zum Anvisieren des 
Objektes enthalt. 

24. Vermessungsinstrument nach einem der Ansprii- 
che 19 bis 23, dadurch gekennzeichnet, dass 
das Reflexionselement aus einem Parallelplattenspie- 
gel mit einer Vorderflache und einer hierzu parallelen 
Riickflache besteht, 

die Vorderflache der Objektivlinse zugewandt und als 
Sendespiegel ausgebildet ist, der das Messlicht iiber 
die Objektivlinse auf das Objekt reflektiert, 
die Riickflache als Empfangsspiegel ausgebildet ist, 
der das an dem Objekt reflektierte Messlicht reflektiert, 
und 

das Messlicht, das an dem Objekt reflektiert wird, an- 
schlieBend durch die Objektivlinse tritt und von dem 
Reflexionselement nicht an seiner Lichtausbreitung ge- 
hindert wird, an dem Empfangsspiegel auf die Ein- 
trittsflache der Lichtleitoptik reflektiert wird. 

25. Vermessungsinstrument nach einem der Ansprii- 
che 19 bis 24, dadurch gekennzeichnet, dass die Licht- 
abschirmmaske scheibenformig ist. 

26. Vermessungsinstrument mit 
einer Entfernungsmessoptik mit einer Objektivlinse, 
iiber welche die Entfemung eines Objektes zu dem 
Vermessungsinstrument gemessen wird, 
einem optischen Entfemungsmesser mit einem hinter 
der Objektivlinse angeordneten Reflexionselement, ei- 
ner Sendeoptik, die Messlicht iiber das Reflexionsele- 
ment und die Objektivlinse auf das Objekt aussendet, 
und einer Empfangsoptik zum Empfangen von Licht, 
das an dem Objekt reflektiert wird, anschlieBend durch 
die Objektivlinse tritt und von dem Reflexionselement 
nicht an seiner Lichtausbreitung gehindert wird, und 
einer Scharfenerfassungsvorrichtung zum Erfassen des 
Scharfstellzustandes der Entfernungsmessoptik, da- 
durch gekennzeichnet, 
dass die Empfangsoptik versehen ist mit 
mehreren Lichtleitoptiken, 

einer Lichtabschirmmaske mit mehreren Offnungen, 
iiber die das an dem Objekt reflektierte Messlicht ent- 
sprechend der Entfemung des Objektes von dem Ver- 
messungsinstrument wahlweise auf das Eintrittsende 
einer der Lichtleitoptiken trifft, 
einer Verstellvorrichtung zum Bewegen der Lichtab- 
schirmmaske derail, dass das an dem Objekt reflek- 
tierte Messlicht wahlweise auf das Eintrittsende der je- 
weiligen Lichtleitoptik trifft, und 
einer Steuerung, welche die Verstellvorrichtung so an- 
steuert, dass diese die Lichtabschirmmaske derart be- 
wegt, dass das an dem Objekt reflektierte Messlicht 
entsprechend dem von der Scharfenerfassungsvorrich- 
tung erfassten Scharfstellzustand auf das Eintrittsende 
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der jeweiligen Lichtleitoptik trifft. 

27. Vermessungsinstrument nach Anspruch 26, da- 
durch gekennzeichnet, dass die Durchmesser der Off- 
nungen voneinander verschieden und die Durchmesser 
der Lichdeitoptiken einander gleich sind. 5 

28. Vermessungsinstrument nach Anspruch 26, da- 
durch gekennzeichnet, dass die Durchmesser der Off- 
nungen voneinander verschieden und die Durchmesser 
der Lichtleitoptiken den Durchmessern der ihnen zuge- 
ordneten Offnungen der Lichtabschirmmaske entspre- to 
chen. 

29. Vermessungsinstrument nach einem der Ansprii- 
che 26 bis 28, dadurch gekennzeichnet, dass die Entfer- 
nungsmessoptik ein Zieifemrohr zum Anvisieren des 
Objektes enthalt, 15 
die Scharfenerfassungsvorrichtung eine nach dem 
Prinzip der Phasendifferenzerfassung arbeitende Vor- 
richtung enthalt, die den Scharfstellzustand des Ziel- 
fernrohrs aus der Korrelation zwischen zwei Bildern 

• erfasst, die von zwei Lichtbiindeln erzeugt werden, die 20 
durch zwei verschiedene, auf der Objektivlinse festge- 
legte Pupillenbereiche treten, und 
Elemente des optischen Entfernungsmessers so ange- 
ordnet sind, dass sie die beiden Pupillenbereiche nicht 
storen. 25 

30. Vermessungsinstrument nach einem der Ansprii- 
che 26 bis 29, dadurch gekennzeichnet, dass die Mittel- 
achsen der Eintrittsflachen der Lichtleitoptiken auf ei- 
ner geraden Linie angeordnet sind. 

31. Vermessungsinstrument nach einem der Ansprii- 30 
che 26 bis 29, dadurch gekennzeichnet, dass die Emp- 
fangsoptik ein Lichtempfangselement enthalt, auf wel- 
ches liber die Lichtleitoptiken das an dem Objekt re- 
flektierte Messlicht trifft, und die Mittelachsen der 
Austrittsflachen der Lichtleitoptiken auf einen Kreis 35 
um die Achse des Lichtempfangselementes angeordnet 
sind. 

32. Vermessungsinstrument nach einem der Ansprii- 
che 26 bis 30, dadurch gekennzeichnet, dass die Emp- 
fangsoptik mehrere Lichtempfangselemente enthalt, 40 
auf die iiber die jeweiligen Lichtleitoptiken das an dem 
Objekt reflektierte Messlicht trifft. 

33. Vermessungsinstrument nach einem der Ansprii- 
che 26 bis 32, dadurch gekennzeichnet, dass die Licht- 
leitoptiken jeweils einen Lichtleiter enthalten. 45 

34. Vermessungsinstrument mit Autofokussystem, mit 
einer Entfernungsmessoptik mit einer Objektivlinse, 
iiber welche die Entfernung eines Objektes zu dem 
Vermessungsinstrument gemessen wird, 

einem optischen Entfemungsmesser mit einem hinter 50 
der Objektivlinse angeordneten Reflexionselement, ei- 
ner Sendeoptik, die Messlicht iiber das Reflexionsele- 
ment und die Objektivlinse auf das Objekt aussendet, 
und einer Empfangsoptik zum Empfangen von Licht, 
das an dem Objekt reflektiert wird, anschlieBend durch 55 
die Objektivlinse tritt und von dem Reflexionselement 
nicht an seiner Lichtausbreitung gehindert wird, 
einer Scharfenerfassungsvorrichtung, die den Scharf- 
stellzustand der Entfernungsmessoptik erfasst, und 
einen Autofokusmechanismus zum Bewegen einer 60 
Scharfstelllinse der Entfernungsmessoptik derart, dass 
entsprechend dem von der Scharfenerfassungsvorrich- 
tung erfassten Scharfstellzustand auf das Objekt 
scharfgestellt wird, wobei der Autofokusmechanismus 
eine Erfassungsvorrichtung zum Erf as sen der axialen 65 
Position der Scharfstelllinse enthalt, 
dadurch gekennzeichnet, dass die Empfangsoptik ver- 
sehen ist mit mehreren Lichdeitoptiken, 
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einer Lichtabschirmmaske mit mehreren Offnungen, 
iiber die das an dem Objekt reflektierte Messlicht ent- 
sprechen der Objektentfemung wahlweise auf das Ein- 
trittsende einer der Lichdeitoptiken fallt, 
einer Verstellvorrichtung zum Bewegen der Lichtab- 
schirmmaske derart, dass das an dem Objekt reflek- 
tierte Messlicht wahlweise auf das Eintrittsende der je- 
weiligen Lichtleitoptik fallt, und 
einer Steuerung, welche die Verstellvorrichtung so an- 
steuert, dass diese die Lichtabschirmmaske derart be- 
wegt, dass das an dem Objekt reflektierte Messlicht 
entsprechend der von der Erfassungsvorrichtung er- 
fassten axialen Position der Scharfstelllinse auf das 
Eintrittsende der jeweiligen Lichtleitoptik fallt. 

35. Vermessungsinstrument nach Anspruch 34, da- 
durch gekennzeichnet, dass die Offnungen der Lichtab- 
schirmmaske voneinander verschieden sind und die 
Durchmesser der Lichtleitoptiken den Durchmessern 
der ihnen zugeordneten Offnungen entsprechen. 

36. Vermessungsinstrument nach Anspruch 34 oder 
35, dadurch gekennzeichnet, dass 
die Entfernungsmessoptik ein Zieifemrohr zum Anvi- 
sieren des Objektes enthalt, 

die Scharfenerfassungsvorrichtung eine nach dem 
Prinzip der Phasendifferenzerfassung arbeitende Vor- 
richtung enthalt, die den Scharfstellzustand des Ziel- 
femrohrs aus der Korrelation zwischen zwei Bildern 
erfasst, die von zwei Lichtbiindeln erzeugt werden, die 
durch zwei verschiedene, auf der Objektivlinse festge- 
legte Pupillenbereiche treten, und 
Elemente des optischen Entfernungsmessers so ange- 
ordnet sind, dass sie die beiden Pupillenbereiche nicht 
storen. 

37. Vermessungsinstrument nach einem der Ansprii- 
che 34 bis 36, dadurch gekennzeichnet, dass die Mittel- 
achsen der Eintrittsenden der Lichtleitoptiken auf einer 
geraden Linie angeordnet sind. 

38. Vermessungsinstrument nach einem der Anspru- 
che 34 bis 37, dadurch gekennzeichnet, dass die Emp- 
fangsoptik ein Lichtempfangselement enthalt, auf das 
iiber die Lichdeitoptiken das an dem Objekt reflektierte 
Messlicht trifft, und dass die Mittelachsen der Aus- 
trittsflachen der Lichtleitoptiken auf einem Kreis um 
die Achse des Lichtempfangselementes angeordnet 
sind. 

39. Vermessungsinstrument nach einem der Ansprii- 
che 34 bis 37, dadurch gekennzeichnet, dass die Emp- 
fangsoptik mehrere Lichtempfangselemente enthalt, 
auf die uber die ihnen zugeordneten Lichdeitoptiken 
das an dem Objekt reflektierte Messlicht trifft. 

40. Vermessungsinstrument nach einem der Ansprii- 
che 34 bis 39, dadurch gekennzeichnet, dass die Licht- 
leitoptiken jeweils einen Lichtieiter enthalten. 

Hierzu 14 Seite(n) Zeichnungen 
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